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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】工業プラントモジュールベースエンジニアリン
グ方法を提供する。
【解決手段】プロセスは、1つまたは複数のソース子テ
ンプレートを有するソースエンジニアリングテンプレー
トＡを複製して、インスタンス１を複製せずに1つまた
は複数の複製子テンプレート２、３を有する複製エンジ
ニアリングテンプレートＡ’を作成するためのプロセス
である。
【選択図】図3
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法であって、
　1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエンジニアリングテンプレート
を複製して、前記ソースエンジニアリングテンプレートにおける前記1つまたは複数のソ
ース子テンプレートからインスタンス化された1つまたは複数の子インスタンスを含むイ
ンスタンスを複製することなしに、それぞれ、1つまたは複数のソース子テンプレートに
対応する1つまたは複数の複製子テンプレートを有する複製エンジニアリングテンプレー
トを作成するステップであって、前記複製エンジニアリングテンプレートがインスタンス
を有さず、前記1つまたは複数の子インスタンスの各々が、前記ソースエンジニアリング
テンプレートへの元のリンクを有する、ステップと、
　前記ソースエンジニアリングテンプレートからインスタンス化された1つまたは複数の
子インスタンスから少なくとも1つの子インスタンスを選択するステップであって、前記
選択された少なくとも1つの子インスタンスが、前記ソースエンジニアリングテンプレー
トへの元のリンクを有する、ステップと、
　前記元のリンクを前記選択された少なくとも1つの子インスタンスと前記複製エンジニ
アリングテンプレートとの間の新しいリンクに変更するステップであって、前記選択され
た少なくとも1つの子インスタンスが、前記複製エンジニアリングテンプレートへの前記
新しいリンクを有し、前記ソースエンジニアリングテンプレートへの前記元のリンクを有
さず、選択されない1つまたは複数の子インスタンスが、前記ソースエンジニアリングテ
ンプレートへの前記元のリンクを保持する、ステップとを含む工業プラントモジュールベ
ースエンジニアリング方法。
【請求項２】
　前記1つまたは複数のソース子テンプレートを有する前記ソースエンジニアリングテン
プレートをインスタンス化して、前記1つまたは複数のソース子テンプレートを有する前
記ソースエンジニアリングテンプレートを複製する前に各インスタンスが1つまたは複数
の子インスタンスを有する1つまたは複数のインスタンスを作成する、請求項1に記載の工
業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項３】
　前記1つまたは複数のソース子テンプレートを有する前記ソースエンジニアリングテン
プレートは、ソースクラスモジュールへのリンクを有する1つまたは複数のソース子クラ
スモジュールを有するソースグループクラスモジュールを備え、
　前記1つまたは複数の子インスタンスは、前記ソースエンジニアリングテンプレートか
らインスタンス化されており、前記ソースクラスモジュールへのリンクを有する1つまた
は複数の子アプリケーションモジュールを備える、請求項2に記載の工業プラントモジュ
ールベースエンジニアリング方法。
【請求項４】
　前記ソースクラスモジュールをインスタンス化して、前記ソースクラスモジュールへの
リンクを有する1つまたは複数のクラスベースアプリケーションモジュールを作成するス
テップをさらに含む、請求項3に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング
方法。
【請求項５】
　前記ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成するステップをさ
らに含む、請求項4に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項６】
　前記ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成した後、前記1つ
または複数のクラスベースアプリケーションモジュールのうちの選択されたクラスベース
アプリケーションモジュールと前記ソースクラスモジュールとの間の前記リンクを前記選
択されたクラスベースアプリケーションモジュールと前記複製クラスモジュールとの間の
リンクに変更するステップをさらに含む、請求項5に記載の工業プラントモジュールベー
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スエンジニアリング方法。
【請求項７】
　前記ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成した後、前記1つ
または複数の子アプリケーションモジュールのうちの選択された子アプリケーションモジ
ュールと前記ソースクラスモジュールとの間の前記リンクを前記選択された子アプリケー
ションモジュールと前記複製クラスモジュールとの間のリンクに変更するステップをさら
に含む、請求項5に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項８】
　ソースクラスモジュールへのリンクを有する1つまたは複数のソース子クラスモジュー
ルを有する前記ソースグループクラスモジュールを複製して、前記ソースクラスモジュー
ルへのリンクを有する前記1つまたは複数の複製子クラスモジュールを有する複製グルー
プクラスモジュールを作成するステップをさらに含む、請求項5に記載の工業プラントモ
ジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項９】
　前記1つまたは複数のソース子クラスモジュールを有する前記ソースグループクラスモ
ジュールをインスタンス化して、前記ソースグループクラスモジュールへのリンクを有す
る1つまたは複数のグループアプリケーションモジュールを作成するステップであって、
前記1つまたは複数のグループアプリケーションモジュールが前記ソースクラスモジュー
ルへの1つまたは複数の子アプリケーションモジュールを有する、ステップをさらに含む
、請求項8に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項１０】
　前記ソースグループクラスモジュールをインスタンス化して前記1つまたは複数のグル
ープアプリケーションモジュールを作成した後、前記1つまたは複数のグループアプリケ
ーションモジュールのうちの選択されたグループアプリケーションモジュールと前記ソー
スグループクラスモジュールとの間の前記リンクを前記選択されたグループアプリケーシ
ョンモジュールと前記複製グループクラスモジュールとの間のリンクに変更するステップ
をさらに含む、請求項9に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項１１】
　前記選択されたグループアプリケーションモジュールと前記ソースグループクラスモジ
ュールとの間の前記リンクを前記選択されたグループアプリケーションモジュールと前記
複製グループクラスモジュールとの間の前記リンクに変更した後、前記選択されたグルー
プアプリケーションモジュールの前記1つまたは複数の子アプリケーションモジュールの
うちの選択された子アプリケーションモジュールと前記ソース子クラスモジュールとの間
の前記リンクを前記選択された子アプリケーションモジュールと前記複製子クラスモジュ
ールとの間のリンクに変更するステップをさらに含む、請求項10に記載の工業プラントモ
ジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項１２】
　前記ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成した後、前記1つ
または複数のクラスベースアプリケーションモジュールのうちの選択されたクラスベース
アプリケーションモジュールと前記ソースクラスモジュールとの間の前記リンクを前記選
択されたクラスベースアプリケーションモジュールと前記複製クラスモジュールとの間の
リンクに変更するステップをさらに含む、請求項11に記載の工業プラントモジュールベー
スエンジニアリング方法。
【請求項１３】
　前記ソースクラスモジュールを複製して前記複製クラスモジュールを作成した後、前記
1つまたは複数の子アプリケーションモジュールのうちの選択された子アプリケーション
モジュールと前記ソースクラスモジュールとの間の前記リンクを前記選択された子アプリ
ケーションモジュールと前記複製クラスモジュールとの間のリンクに変更するステップを
さらに含む、請求項12に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項１４】
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　各グループクラスモジュールは、
　i)複数のクラスモジュールのグループ化、および
　ii)複数の論理制御モジュール図面の複合ループを定義するための複数の図面へ前記ク
ラスモジュールの割当てを定義する少なくとも1つの割振りを含む、請求項9に記載の工業
プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項１５】
　前記ソースグループクラスモジュールをインスタンス化する前記ステップは、
　前記ソースグループクラスモジュールの階層を反映することによって前記ソースグルー
プクラスモジュールをインスタンス化して、アプリケーション構造ナビゲータにおいて、
前記グループクラスモジュールからグループアプリケーションモジュールおよび前記グル
ープアプリケーションモジュールの階層を生成するステップと、
　子クラスモジュールをインスタンス化して、前記アプリケーション構造ナビゲータにお
いて、前記子クラスモジュールから子アプリケーションモジュールを生成するステップと
を含む、請求項14に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項１６】
　各グループクラスモジュールの前記割振りおよび各グループクラスモジュールの前記複
合ループのそれぞれのトポロジーを更新するステップであって、グループモジュール更新
エンジンが、各グループアプリケーションモジュールの前記割振りおよび各グループアプ
リケーションモジュールの前記複合ループのそれぞれのトポロジーを更新するように構成
される、ステップをさらに含む、請求項15に記載の工業プラントモジュールベースエンジ
ニアリング方法。
【請求項１７】
　前記グループクラスモジュールの少なくとも1つの割振りに基づいて、前記グループア
プリケーションモジュールおよびレガシーアプリケーションモジュール(レガシーAPM)を
工業プラントにおけるフィールドコントローラの図面にバインドするステップであって、
前記レガシーアプリケーションモジュールが、iii)ソースクラスモジュールを参照するク
ラスベースアプリケーションモジュール、およびiv)ソースクラスモジュールを参照しな
いクラスレスアプリケーションモジュールのうちの少なくとも一方である、ステップをさ
らに含む、請求項16に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項１８】
　各グループクラスモジュールは、複数の子クラスモジュールと、フォルダと、前記子ク
ラスモジュールおよび前記フォルダの階層とを有する、請求項17に記載の工業プラントモ
ジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項１９】
　各グループクラスモジュールは、
　モジュール設計の文書を生成するために使用される設計文書情報と、
　前記クラスモジュールに関するアーチファクトを記憶するために使用されるアタッチメ
ントと、
　クラスモジュールのグループ化および複数の制御図面への前記クラスモジュールの割当
てを定義してフィールド制御システムの図面についての複合ループを定義する前記割振り
とを備える、請求項18に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項２０】
　前記クラスモジュールは、
　モジュール設計の文書を生成するために使用される設計文書情報と、
　前記クラスモジュールに関するアーチファクトを記憶するために使用されるアタッチメ
ントと、
　プロセス制御の論理情報を含む制御論理と、
　アラーム属性と、
　チューニングパラメータとを備える、請求項19に記載の工業プラントモジュールベース
エンジニアリング方法。
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【請求項２１】
　子クラスモジュールにおいてインスタンス化すべきでない部分を選択して、単一のグル
ープクラスモジュールからそれぞれに異なるグループアプリケーションモジュールのセッ
トを生成するステップをさらに含む、請求項9に記載の工業プラントモジュールベースエ
ンジニアリング方法。
【請求項２２】
　各グループクラスモジュールにおいて定義される複数の論理制御図面を複数の物理フィ
ールド制御システムのそれぞれに割り当てるステップをさらに含む、請求項9に記載の工
業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項２３】
　グループモジュール更新エンジンが、グループクラスモジュールの複合ループのそれぞ
れのトポロジーを更新する場合に、前記グループクラスモジュールからインスタンス化さ
れた前記グループアプリケーションモジュールを参照する前記子アプリケーションモジュ
ールの追加および削除の少なくとも一方を実行するステップをさらに含む、請求項9に記
載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項２４】
　グループモジュール更新エンジンが、グループクラスモジュールの複合ループのそれぞ
れのトポロジーを更新する場合に、前記グループクラスモジュールからインスタンス化さ
れた前記グループアプリケーションモジュールを参照する前記子アプリケーションモジュ
ールのコンテンツを更新するステップをさらに含む、請求項9に記載の工業プラントモジ
ュールベースエンジニアリング方法。
【請求項２５】
　グループモジュール更新エンジンが、各グループアプリケーションモジュールの複合ル
ープのそれぞれのトポロジーを更新する場合に、グループクラスモジュールからインスタ
ンス化された前記グループアプリケーションモジュールを参照する前記子アプリケーショ
ンモジュールの追加および削除の少なくとも一方を実行するステップをさらに含む、請求
項9に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項２６】
　グループモジュール更新エンジンが、各グループアプリケーションモジュールの複合ル
ープのそれぞれのトポロジーを更新する場合に、グループクラスモジュールからインスタ
ンス化された前記グループアプリケーションモジュールを参照する前記子アプリケーショ
ンモジュールのコンテンツを更新するステップをさらに含む、請求項9に記載の工業プラ
ントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項２７】
　各グループアプリケーションモジュールは、
　iii)アプリケーションモジュールのグループ化、および
　iv)複数の制御図面への前記アプリケーションモジュールの割当てを定義して複数の論
理制御図面の複合ループを定義する少なくとも1つの割振りを含む、請求項9に記載の工業
プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【請求項２８】
　グループモジュール更新エンジンが、各グループクラスモジュールの割振りおよび各グ
ループクラスモジュールの複合ループのそれぞれのトポロジーを更新した場合に、各グル
ープアプリケーションモジュールの前記割振りおよび各グループアプリケーションモジュ
ールの前記複合ループの前記それぞれのトポロジーを更新するステップをさらに含む、請
求項9に記載の工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、概してプロセス制御システムを構成または設計するための方法お
よびシステムに関し、より詳細には、工業プラントのプロセス制御システムについてのエ
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ンジニアリングデータを効率的に作成し修正するための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
[モジュールベースエンジニアリングの概要]
　工業プラントにおいて、モジュールベースエンジニアリングは、プラント器械、安全器
械、および維持管理を含む、全体的なプラント制御システムを構成し維持することによる
オートメーション設計に有用である。一般に、オートメーションエンジニアリングシステ
ムのサーバは、エンジニアリングデータのデータベースを集中的に管理して、プラント制
御システムを拡張、修正、または維持するために設計情報を利用可能にし、設計情報とプ
ラント制御システムに記憶された実際の情報との間の不一致を修正するための不要な人的
資源を節約する。モジュールベースエンジニアリングは、制御論理および設計情報をモジ
ュールに変換し、次いでオートメーションエンジニアリングシステムのサーバにおいてモ
ジュール同士を組み合わせることによって制御アプリケーションおよびアラームを設計す
るためのエンジニアリング方法を指す。モジュールは一般に、過去の設計パターン経験か
ら収集された顧客情報およびノウハウなどの独立したソフトウェア構成要素からなること
があり、制御論理、アラーム属性、および設計情報を含むこともある。以前のプロジェク
トにおいて構成されたモジュールを再使用すると、エンジニアリング品質を向上させ、エ
ンジニアリング時間を短縮することができ、このことはプロジェクト期間を短縮すること
に寄与する。図1は、オートメーション設計についてのモジュールベースエンジニアリン
グの一般的な概念の概略図である。図1に示すように、モジュールは、オートメーション
エンジニアリングシステムのエンジニアリングツールによって構成し、オートメーション
エンジニアリングシステムのサーバに登録し、かつオートメーションエンジニアリングの
サーバからダウンロードすることができる。エンジニアリング設計情報は、エンジニアリ
ング結果の要約文書を作成するために保存される。さらに、モジュールベースエンジニア
リングは、以下のエンジニアリングタスク、すなわち入出力設計、制御アプリケーション
設計、およびシステム構成設計と同時に実行することができる。
【０００３】
　モジュールベースエンジニアリングでは、制御論理、アラーム属性、設計情報、および
アタッチメントがモジュールと見なされる。モジュールは一般に、設計情報、制御論理、
チューニングパラメータ、アラーム属性、およびアタッチメントを含むことがある。機能
仕様などの設計情報は、モジュール構成要素として定義されることがある。設計情報は一
般に、モジュールの詳細について説明するテキスト、画像、および表を含むことがある。
制御論理は、制御図面、ならびに機能ブロック、スイッチ、およびメッセージの詳細な定
義を含むことがある。制御論理は、クラスモジュールまたはアプリケーションモジュール
において定義されることがある。モジュールベースエンジニアリングは、フィールド制御
システムの制御論理に定義された機能ブロックにおけるチューニングパラメータ設計値の
バルク編集により、かつフィールド制御システムのチューニングパラメータ設計値および
現在の値を比較し設定することによって、チューニングパラメータをモジュール構成要素
として見なすのを可能にすることがある。フィールド制御システムは、ハードウェア入出
力コントローラであってもよい。アラーム属性は、アラーム設定値およびアラーム優先順
位であってもよい。任意のファイルをモジュール構成要素として付加することができる。
アタッチメントのリストは単純な動作によって起動することができる。
【０００４】
　モジュールベースエンジニアリングには2種類のモジュール、たとえばクラスモジュー
ルおよびアプリケーションモジュールが利用可能である。クラスモジュールは、制御アプ
リケーションについてのテンプレートとして使用され、アプリケーションモジュールは実
際の制御アプリケーションとして働く。クラスモジュールはテンプレートである。クラス
モジュールに基づいて、実際の制御アプリケーションを実行するアプリケーションモジュ
ールを作成することができる。アプリケーションモジュールは、テンプレートとして使用
されるクラスモジュールとの関係を維持し、クラスモジュールに対する変更はアプリケー
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ションモジュールに反映される。単一のモジュールが複数のアプリケーションモジュール
についてのテンプレートとして使用される。アプリケーションモジュールは、入出力およ
びタグ名をアプリケーションモジュールに割り当てることによって制御アプリケーション
を実行する。2種類のアプリケーションモジュール、たとえば、クラスモジュールに基づ
いて作成されるクラスベースアプリケーションモジュール、およびクラスモジュールを使
用せずに作成されるクラスレスアプリケーションモジュールが利用可能である。
【０００５】
　モジュールベースエンジニアリングは、入出力、制御アプリケーション、およびシステ
ム構成を並行して設計するのを可能にすることがあり、それによってシステム構成を仕上
げる前に制御アプリケーションおよび入出力の設計を開始するのを可能にする。制御アプ
リケーションを設計した後でも、入出力設計が柔軟に変更されてもよい。プラント情報は
、制御システムエンジニアリングを実施するための様々な種類の情報を含む。モジュール
ベースエンジニアリングでは、入出力は、プラントの取得された入出力情報に基づいて設
計されてもよい。一般に、オートメーションエンジニアリングシステムのエンジニアリン
グツールは、入出力を設計して、プラント入出力情報を表形式の入出力情報リストとして
構成するために使用されてもよい。入出力情報リストは、入出力タグ名、入出力モジュー
ルタイプ、および入出力モジュールが装備されるFCSステーション名、ならびに各入出力
の特定の情報などの情報を定義する。入出力情報リストに対してエクスポートおよび/ま
たはインポートを行うことができる。入出力情報リストの設定情報は、エクスポートされ
た外部ファイル上で編集されてもよく、設定情報は、オートメーションエンジニアリング
システムのエンジニアリングツールにインポートされてもよい。まず必要に応じてクラス
モジュールが作成される。次いで、クラスモジュールを使用するかまたはクラスモジュー
ルを使用せずにアプリケーションモジュールが作成される。オートメーションエンジニア
リングシステムのエンジニアリングツールは、制御アプリケーション設計のエンジニアリ
ングに使用される。アプリケーションモジュールの入出力端末に入出力タグ名が与えられ
る。アプリケーションモジュールの機能ブロックに実際のタグ名が適用される。入出力タ
グ名に基づいて制御アプリケーションが作成されるので、制御アプリケーションは、入出
力モジュール割当て情報または各入出力の特定の情報などの入出力設計が完了する前に作
成することができる。
【０００６】
　入出力アプリケーションおよび制御アプリケーションを設計すること以外の項目のエン
ジニアリングは、フィールド制御ステーション(FCS)およびヒューマンインターフェース
ステーション(HIS)などのシステム構成ならびにプロジェクトに共通し各ステーションに
関連する項目を設計することによって行われる。これらの項目は、システムビューによっ
て構成される。オートメーションエンジニアリングシステムのエンジニアリングツールは
、コモンスイッチ、グローバルスイッチ、アナンシエータ、信号イベント、オペレータ案
内メッセージ、および印刷メッセージなどのスイッチを設定するために使用される。シス
テム構成とは独立にオートメーションエンジニアリングシステムのエンジニアリングツー
ルにおいて作成される入出力設計および制御アプリケーション設計のエンジニアリングデ
ータは最終的に、フィールド制御ステーション(FCS)に割り当てられ、任意のプロジェク
トデータとして生成される。プロセス入出力、シリアル通信イーサネット(登録商標)通信
についてのエンジニアリングは、プロジェクトデータが完成するときに完了する。
【０００７】
　プロジェクトデータを完成することによってモジュールベースエンジニアリングが終了
すると、試験機能の定義済みのセットを使用することによって制御アプリケーション試験
が行われる。モジュールベースエンジニアリングをサポートする機能は、文書生成機能、
バルク編集機能、チューニングパラメータ管理機能を含む。文書生成機能は、モジュール
の設計情報と様々なエンジニアリングデータを統合して単一の文書ファイルを生成する機
能である。チューニングパラメータ管理機能は、制御アプリケーションを作成する際に設
計される機能ブロックチューニングパラメータ値およびフィールド制御システムの現在の
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チューニングパラメータ値を管理するための機能である。バルク編集機能は、制御アプリ
ケーションを構成する間に設計されるモジュールの制御論理およびアラーム属性を集合的
に編集するための機能である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　いくつかの態様において、いくつかの実施形態では、工業プラントモジュールベースエ
ンジニアリング方法は、限定はしないが、ソースエンジニアリングテンプレートを複製す
るステップと、少なくとも1つの子インスタンスを選択するステップと、元のリンクを新
しいリンクに変更するステップとを含んでもよい。ソースエンジニアリングテンプレート
を複製するためのプロセスは、限定はしないが、1つまたは複数のソース子テンプレート
を有するソースエンジニアリングテンプレートを複製して、ソースエンジニアリングテン
プレートにおける1つまたは複数のソース子テンプレートからインスタンス化された1つま
たは複数の子インスタンスを含むインスタンスを複製することなしに、それぞれ、1つま
たは複数のソース子テンプレートに対応する1つまたは複数の複製子テンプレートを有す
る複製エンジニアリングテンプレートを作成するステップであって、複製エンジニアリン
グテンプレートがインスタンスを有さず、1つまたは複数の子インスタンスの各々が、ソ
ースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを有する、ステップを含んでもよい。
少なくとも1つの子インスタンスを選択するためのプロセスは、限定はしないが、ソース
エンジニアリングテンプレートからインスタンス化された1つまたは複数の子インスタン
スから少なくとも1つの子インスタンスを選択するステップであって、選択された少なく
とも1つの子インスタンスが、ソースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを有
する、ステップを含んでもよい。元のリンクを新しいリンクに変更するためのプロセスは
、限定はしないが、元のリンクを選択された少なくとも1つの子インスタンスと複製エン
ジニアリングテンプレートとの間の新しいリンクに変更するステップであって、選択され
た少なくとも1つの子インスタンスが、複製エンジニアリングテンプレートへの新しいリ
ンクを有し、ソースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを有さず、選択されな
い1つまたは複数の子インスタンスが、ソースエンジニアリングテンプレートへの元のリ
ンクを保持する、ステップを含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】オートメーション設計のためのモジュールベースエンジニアリングの一般的な概
念の概略図である。
【図２Ａ】関連技術における、ソーステンプレートモジュールとソーステンプレートモジ
ュールを参照し/ソーステンプレートモジュールに関連付けられた複数の子インスタンス
との間の関係の一般的な概念の概略図である。
【図２Ｂ】ソーステンプレートモジュールとしてのクラスモジュールと、ソーステンプレ
ートモジュールとしてのクラスモジュールに共通的にリンクするかまたはクラスモジュー
ルを参照する複数のクラスベースアプリケーションモジュールとの間の関係の一般的な概
念の概略図である。
【図３】ソースエンジニアリングテンプレートをインスタンス化した後にソースエンジニ
アリングテンプレートを分岐させるための分岐プロセスの全体的な概念の例示的な例の概
略図である。
【図４】グループクラスモジュールを分岐させるためのプロセスを示す概略図である。
【図５】図4のグループクラスモジュールを分岐させるためのプロセスの後にレガシーク
ラスモジュールを分岐させるためのプロセスを示す概略図である。
【図６】クラスモジュールを分岐させるためのプロセスを示す概略図である。
【図７】グループクラスモジュールベースエンジニアリングに基づいて階層化アーキテク
チャとして編成されたプラント制御システムにおける様々な機器を参照する工業プラント
の階層を示すブロック図である。
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【図８】制御モジュールレベル、機器モジュールレベル、および/またはユニットレベル
で再使用可能なグループクラスモジュールを使用するグループモジュールベースエンジニ
アリングシステムを含むプラントエンジニアリングシステムを示すブロック図である。
【図９】グループクラスモジュール、およびグループクラスモジュールから部分的にイン
スタンス化された2つのグループアプリケーションモジュールの例を示す図である。
【図１０】グループクラスモジュールおよびグループアプリケーションモジュールのため
の更新管理の例を示す図である。
【図１１】グループアプリケーションモジュールのためのモジュール更新のサンプルシナ
リオを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　いくつかの実施形態では、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限
定はしないが、ソースエンジニアリングテンプレートを複製するステップと、少なくとも
1つの子インスタンスを選択するステップと、元のリンクを新しいリンクに変更するステ
ップとを含んでもよい。ソースエンジニアリングテンプレートを複製するためのプロセス
は、限定はしないが、1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエンジニア
リングテンプレートを複製して、ソースエンジニアリングテンプレートにおける1つまた
は複数のソース子テンプレートからインスタンス化された1つまたは複数の子インスタン
スを含むインスタンスを複製するステップなしに、それぞれ、1つまたは複数のソース子
テンプレートに対応する1つまたは複数の複製子テンプレートを有する複製エンジニアリ
ングテンプレートを作成するステップを含み、複製エンジニアリングテンプレートはイン
スタンスを有さず、1つまたは複数の子インスタンスの各々は、ソースエンジニアリング
テンプレートへの元のリンクを有する。少なくとも1つの子インスタンスを選択するため
のプロセスは、限定はしないが、ソースエンジニアリングテンプレートからインスタンス
化された1つまたは複数の子インスタンスから少なくとも1つの子インスタンスを選択する
ステップであって、選択された少なくとも1つの子インスタンスが、ソースエンジニアリ
ングテンプレートへの元のリンクを有する、選択するステップを含んでもよい。元のリン
クを新しいリンクに変更するためのプロセスは、限定はしないが、元のリンクを選択され
た少なくとも1つの子インスタンスと複製エンジニアリングテンプレートとの間の新しい
リンクに変更するステップであって、選択された少なくとも1つの子インスタンスが、複
製エンジニアリングテンプレートへの新しいリンクを有し、ソースエンジニアリングテン
プレートへの元のリンクを有さず、選択されない1つまたは複数の子インスタンスが、ソ
ースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを保持する、変更するステップを含ん
でもよい。
【００１１】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエンジニアリングテンプレ
ートをインスタンス化して、1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエン
ジニアリングテンプレートを複製する前に1つまたは複数の子インスタンスを有する1つま
たは複数のインスタンスを作成するステップをさらに含んでもよい。
【００１２】
　場合によっては、1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエンジニアリ
ングテンプレートは、限定はしないが、ソースクラスモジュールへのリンクを有する1つ
または複数のソース子クラスモジュールを有するソースグループクラスモジュールを含ん
でもよく、1つまたは複数の子インスタンスは、ソースエンジニアリングテンプレートか
らインスタンス化されており、限定はしないが、ソースクラスモジュールへのリンクを有
する1つまたは複数の子アプリケーションモジュールを含んでもよい。
【００１３】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、ソースクラスモジュールをインスタンス化して、ソースクラスモジュールへのリン
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クを有する1つまたは複数のクラスベースアプリケーションモジュールを作成するステッ
プをさらに含んでもよい。
【００１４】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成するステップをさ
らに含んでもよい。
【００１５】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成した後、1つまた
は複数のクラスベースアプリケーションモジュールのうちの選択されたクラスベースアプ
リケーションモジュールとソースクラスモジュールとの間のリンクを選択されたクラスベ
ースアプリケーションモジュールと複製クラスモジュールとの間のリンクに変更するステ
ップをさらに含んでもよい。
【００１６】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成した後、1つまた
は複数の子アプリケーションモジュールのうちの選択された子アプリケーションモジュー
ルとソースクラスモジュールとの間のリンクを選択された子アプリケーションモジュール
と複製クラスモジュールとの間のリンクに変更するステップをさらに含んでもよい。
【００１７】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、ソースクラ
スモジュールへのリンクを有する1つまたは複数のソース子クラスモジュールを有するソ
ースグループクラスモジュールを複製して、ソースクラスモジュールへのリンクを有する
1つまたは複数のソース子クラスモジュールを有する複製グループクラスモジュールを作
成するステップをさらに含んでもよい。
【００１８】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、1つまたは複数のソース子クラスモジュールを有するソースグループクラスモジュ
ールをインスタンス化して、ソースグループクラスモジュールへのリンクを有する1つま
たは複数のグループアプリケーションモジュールを作成するステップであって、1つまた
は複数のグループ子アプリケーションモジュールが、ソースクラスモジュールへの1つま
たは複数の子アプリケーションモジュールリンクを有する、ステップをさらに含んでもよ
い。
【００１９】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、ソースグループクラスモジュールをインスタンス化して1つまたは複数のグループ
アプリケーションモジュールを作成した後、1つまたは複数のグループアプリケーション
モジュールのうちの選択されたグループアプリケーションモジュールとソースグループク
ラスモジュールとの間のリンクを選択されたグループアプリケーションモジュールと複製
グループクラスモジュールとの間のリンクに変更するステップをさらに含んでもよい。
【００２０】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、選択されたグループアプリケーションモジュールとソースグループクラスモジュー
ルとの間のリンクを選択されたグループアプリケーションモジュールと複製グループクラ
スモジュールとの間のリンクに変更した後、選択されたグループアプリケーションモジュ
ールの1つまたは複数の子アプリケーションモジュールのうちの選択された子アプリケー
ションモジュールとソース子クラスモジュールとの間のリンクを選択された子アプリケー
ションモジュールと複製子クラスモジュールとの間のリンクに変更するステップをさらに
含んでもよい。
【００２１】
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　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成した後、1つまた
は複数のクラスベースアプリケーションモジュールのうちの選択されたクラスベースアプ
リケーションモジュールとソースクラスモジュールとの間のリンクを選択されたクラスベ
ースアプリケーションモジュールと複製クラスモジュールとの間のリンクに変更するステ
ップをさらに含んでもよい。
【００２２】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、ソースクラスモジュールを複製して複製クラスモジュールを作成した後、1つまた
は複数の子アプリケーションモジュールのうちの選択された子アプリケーションモジュー
ルとソースクラスモジュールとの間のリンクを選択された子アプリケーションモジュール
と複製クラスモジュールとの間のリンクに変更するステップをさらに含んでもよい。
【００２３】
　場合によっては、各グループクラスモジュールは、i)複数のクラスモジュールのグルー
プ化、およびii)複数の図面へのクラスモジュールの割当てを定義して複数の論理制御モ
ジュール図面の複合ループを定義する少なくとも1つの割振りを含む。
【００２４】
　場合によっては、ソースグループクラスモジュールをインスタンス化するステップは、
限定はしないが、ソースグループクラスモジュールの階層を反映することによってソース
グループクラスモジュールをインスタンス化して、アプリケーション構造ナビゲータにお
いて、グループクラスモジュールからグループアプリケーションモジュールおよびグルー
プアプリケーションモジュールの階層を生成するステップと、子クラスモジュールをイン
スタンス化して、アプリケーション構造ナビゲータにおいて、子クラスモジュールから子
アプリケーションモジュールを生成するステップとを含んでもよい。
【００２５】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、各グループクラスモジュールの割振りおよび各グループクラスモジュールの複合ル
ープのそれぞれのトポロジーを更新するステップであって、グループモジュール更新エン
ジンが、各グループアプリケーションモジュールの割振りおよび各グループアプリケーシ
ョンモジュールの複合ループのそれぞれのトポロジーを更新するように構成される、ステ
ップをさらに含んでもよい。
【００２６】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、グループクラスモジュールの少なくとも1つの割振りに基づいて、グループアプリ
ケーションモジュールおよびレガシーアプリケーションモジュール(レガシーAPM)を工業
プラントにおけるフィールドコントローラの図面にバインドするステップであって、レガ
シーアプリケーションモジュールが、iii)ソースクラスモジュールを参照するクラスベー
スアプリケーションモジュール、およびiv)ソースクラスモジュールを参照しないクラス
レスアプリケーションモジュールのうちの少なくとも一方である、バインドするステップ
をさらに含んでもよい。
【００２７】
　場合によっては、各グループクラスモジュールは、複数の子クラスモジュールと、フォ
ルダと、子クラスモジュールおよびフォルダの階層とを有する。
【００２８】
　場合によっては、各グループクラスモジュールは、限定はしないが、モジュール設計の
文書を生成するために使用される設計文書情報と、クラスモジュールに関するアーチファ
クトを記憶するために使用されるアタッチメントと、クラスモジュールのグループ化およ
び複数の制御図面へのクラスモジュールの割当てを定義してフィールド制御システムの図
面についての複合ループを定義する割振りとをさらに含んでもよい。
【００２９】
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　場合によっては、クラスモジュールは、限定はしないが、モジュール設計の文書を生成
するために使用される設計文書情報と、クラスモジュールに関するアーチファクトを記憶
するために使用されるアタッチメントと、プロセス制御の論理情報を含む制御論理と、ア
ラーム属性と、チューニングパラメータとをさらに含んでもよい。
【００３０】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、子クラスモジュールにおいてインスタンス化すべきでない部分を選択して、単一の
グループクラスモジュールからそれぞれに異なるグループアプリケーションモジュールの
セットを生成するステップをさらに含んでもよい。
【００３１】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、各グループクラスモジュールにおいて定義される複数の論理制御図面を複数の物理
フィールド制御システムのそれぞれに割り当てるステップをさらに含んでもよい。
【００３２】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、グループモジュール更新エンジンが、グループクラスモジュールの複合ループのそ
れぞれのトポロジーを更新する場合に、グループクラスモジュールからインスタンス化さ
れたグループアプリケーションモジュールを参照する子アプリケーションモジュールの追
加および削除の少なくとも一方を実行するステップをさらに含んでもよい。
【００３３】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、グループモジュール更新エンジンが、グループクラスモジュールの複合ループのそ
れぞれのトポロジーを更新する場合に、グループクラスモジュールからインスタンス化さ
れたグループアプリケーションモジュールを参照する子アプリケーションモジュールのコ
ンテンツを更新するステップをさらに含んでもよい。
【００３４】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、グループモジュール更新エンジンが、各グループアプリケーションモジュールの複
合ループのそれぞれのトポロジーを更新する場合に、グループクラスモジュールからイン
スタンス化されたグループアプリケーションモジュールを参照する子アプリケーションモ
ジュールの追加および削除の少なくとも一方を実行するステップをさらに含んでもよい。
【００３５】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、グループモジュール更新エンジンが、各グループアプリケーションモジュールの複
合ループのそれぞれのトポロジーを更新する場合に、グループクラスモジュールからイン
スタンス化されたグループアプリケーションモジュールを参照する子アプリケーションモ
ジュールのコンテンツを更新するステップをさらに含んでもよい。
【００３６】
　場合によっては、各グループアプリケーションモジュールは、iii)アプリケーションモ
ジュールのグループ化、およびiv)複数の制御図面へのアプリケーションモジュールの割
当てを定義して複数の論理制御図面の複合ループを定義する少なくとも1つの割振りを含
む。
【００３７】
　場合によっては、工業プラントモジュールベースエンジニアリング方法は、限定はしな
いが、グループモジュール更新エンジンが、各グループクラスモジュールの割振りおよび
各グループクラスモジュールの複合ループのそれぞれのトポロジーを更新した場合に、各
グループアプリケーションモジュールの割振りおよび各グループアプリケーションモジュ
ールの複合ループのそれぞれのトポロジーを更新するステップをさらに含んでもよい。
【００３８】
　以下の開示では、一方が通常クラスモジュールを使用し、他方がグループクラスモジュ
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ールを使用する、2種類のモジュールベースエンジニアリング方法について説明する。通
常クラスモジュールベースエンジニアリングの適用範囲は、階層における最低レベルを包
含する。たとえば、通常クラスモジュールベースエンジニアリングの適用範囲は、制御モ
ジュール図面の規則的な単純ループのみを包含し、制御モジュール図面、機器モジュール
図面、および/またはユニット図面の複合ループを含まない。インスタンス化指向のクラ
スモジュールベースオブジェクトの特性および振る舞いに関する制御モジュール図面につ
いてのクラスモジュールのグループ化は、適用範囲を拡張し、グループクラスモジュール
ベースエンジニアリングの適用範囲に最低階層レベルにおける制御モジュール図面の規則
的な単純ループだけでなくより高い階層レベルにおける図面の複合ループも包含すること
を可能にする。グループクラスモジュールベースエンジニアリングの適用範囲は、通常ク
ラスモジュールベースエンジニアリングの適用範囲よりも広い。
【００３９】
　インスタンス化は、クラスの特定のインスタンスを作成するためのプロセスである。
【００４０】
　クラスのインスタンス化はオブジェクトを生成するためのプロセスである。
【００４１】
　オブジェクトはクラスのインスタンスである。オブジェクトはクラスをインスタンス化
することによって生成される。
【００４２】
　グループアプリケーションモジュール(グループAPM)は、グループクラスモジュールの
インスタンスである。
【００４３】
　子アプリケーションモジュール(子APM)は、クラスモジュールのショートカットまたは
参照である子クラスモジュールのインスタンスである。
【００４４】
　クラスは、オブジェクトを作成するための拡張可能なプログラムコードテンプレートで
あり、振る舞いの状態メンバー変数および処理系についての初期値を示す。クラスモジュ
ールは再使用可能なテンプレートである。クラスモジュールは、エンジニアリング論理デ
ータと、アラーム属性と、チューニングパラメータとを含み、パラメータおよびモジュー
ル規則についてのクラスモジュールのデフォルトセットを定義してインスタンス化時にパ
ラメータに値を動的に設定する。クラスは、命令および特性または他のオブジェクトの参
照のセットを含めるためのテンプレートでもある。クラスモジュールは、別のクラスの参
照を含むことのできるクラスとは異なり、別のクラスモジュールを参照することはできな
い。
【００４５】
　クラスモジュールのインスタンス化は、クラスベースアプリケーションモジュールを生
成するためのプロセスである。
【００４６】
　クラスベースアプリケーションモジュールはクラスモジュールのインスタンスである。
【００４７】
　オブジェクトは、クラスをインスタンス化することによって生成され、変数、関数、お
よびデータ構造の組合せ、または名前もしくはキーおよび値の集合から構成されるデータ
タイプから構成される。
【００４８】
　制御ループは、制御ループ内の別の変数の値を操作することによってシステム変数の所
望の値を実現して維持するためにシステムとして協働する構成要素のグループである。各
制御ループは、少なくとも入力と出力とを有する。2種類の制御ループ、開ループと閉ル
ープがある。
【００４９】
　グループは、クラスモジュール間の関係を定義するために論理構造またはトポロジーを
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作成または形成するクラスについてのコンテナである。しかし、クラスとは異なり、グル
ープモジュールは、部分的な構造によってインスタンス化され、一方、クラスは常にその
オブジェクトについての構造全体によってインスタンス化される。
【００５０】
　グループクラスモジュールは、モジュールエンジニアリングの利点を拡張するのを可能
にして、複数の制御図面の複合ループをグループ化することによってグループクラスモジ
ュールの再使用可能性および利便性を向上させる。
【００５１】
[エンジニアリングテンプレートを分岐させないモジュールベースエンジニアリング]
　工業用コントローラは、工業プロセスまたは製造環境を制御するために設計される。工
業用コントローラは一般に、制御プログラムまたは制御論理を特定の工業プロセスについ
て一意に設計する必要がある。ユーザ/エンジニアは、コントローラの制御論理を変更ま
たは構成する場合、自動化エンジニアリングシステムの自動化設計オーガナイザなどのエ
ディタツールを使用して工業プラントのコントローラのエンジニアリングデータまたは設
計データを作成し修正することができる。実際には、制御論理は、工業プラントの様々な
設計ニーズおよび動作要件を満たすために随時変更する必要がある。
【００５２】
　この目的のために、一例として、エンジニアはエンジニアリングテンプレート(ソース
親)を作成して使用し、本明細書におけるエンジニアリングテンプレートは、クラスモジ
ュールとして理解することができ、クラスモジュールは一般に、設計情報の汎用制御論理
を含む。さらに、インスタンスとしての複数のアプリケーションモジュールを、クラスモ
ジュールとしてのエンジニアリングテンプレートに基づいて作成することができる。
【００５３】
　エンジニアリングテンプレートおよびエンジニアリングデータは、後で試験されシステ
ムプロジェクトに展開される。システムプロジェクトは、エンジニアリングデータが記憶
されるデータのグループを指す。試験時には、追加の顧客の要件をサポートするためにエ
ンジニアリングデータを変更することが必要になる場合がある。そのような要件に応じて
、アプリケーションモジュールとしてのインスタンスを変更する必要がある。
【００５４】
　アプリケーションモジュールとしてのインスタンスが変更された後、エンジニアリング
テンプレートと子インスタンスとの間の関係またはリンクが破壊され、エンジニアリング
テンプレートの再使用可能性はもはや利用可能ではなくなる。既存の慣行では、エンジニ
アおよび/またはユーザは、インスタンスに対する修正を実行する必要がある場合、各イ
ンスタンスに対する修正を個々に実行する前に、エンジニアリングテンプレートの、その
インスタンスとのリンクを解除する必要がある。これらのプロセスは、各インスタンスに
対して1つずつ修正を実行する必要があるので、時間がかかりエラーが生じやすい。さら
に、修正すべき各インスタンスとソースエンジニアリングテンプレートとの間のリンクが
破壊されているので、インスタンスは、ソースエンジニアリングテンプレートを参照しな
いクラスレスアプリケーションモジュールになる。
【００５５】
　図2Aは、関連技術における、ソーステンプレートモジュールとソーステンプレートモジ
ュールを参照し/ソーステンプレートモジュールに関連付けられた複数の子インスタンス
との間の関係の一般的な概念の概略図である。図2Bは、ソーステンプレートモジュールと
してのクラスモジュール1(CM1)と、ソーステンプレートモジュールとしてのクラスモジュ
ール1(CM1)に共通的にリンクするかまたはクラスモジュール1(CM1)を参照する複数のクラ
スベースアプリケーションモジュール1、2、3、および4(クラスベースAPM1、APM2、APM3
、およびAPM4)との間の関係の一般的な概念の概略図である。
【００５６】
　クラスモジュールは、エンジニアリングテンプレートとして理解することができ、複数
のクラスベースアプリケーションモジュール/インスタンス1、2、3、および4(APM1、APM2
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、APM3、およびAPM4)はクラスモジュールに基づいて作成することができる。一例として
、複数のクラスベースアプリケーションモジュール/インスタンス1、2、3、および4(APM1
、APM2、APM3、およびAPM4)はクラスモジュール1(CM1)に基づいてインスタンス化され、
エンジニアがインスタンス化後に各子インスタンスに対する修正を実行するには、クラス
モジュール1(CM1)と複数のクラスベースアプリケーションモジュール1、2、3、および4(A
PM1、APM2、APM3、およびAPM4)との間の関係またはリンクを破壊する必要がある。
【００５７】
　複数のクラスベースアプリケーションモジュール/インスタンス1、2、3、および4(クラ
スベースAPM1、APM2、APM3、およびAPM4)のうちの一部またはすべてが変更された後、エ
ンジニアリングテンプレートとしてのクラスモジュール1(CM1)とクラスベースアプリケー
ションモジュール1、2、3、および4(APM1、APM2、APM3、およびAPM4)における子インスタ
ンスとの間の関係またはリンクは破壊され、関係またはリンクはもはや利用可能ではなく
なる。したがって、クラスモジュール1(CM1)の再使用可能性は利用できなくなる。既存の
慣行では、エンジニアまたはユーザは、インスタンスとしての複数のクラスベースアプリ
ケーションモジュール1、2、3、および4(クラスベースAPM1、APM2、APM3、およびAPM4)の
うちの一部またはすべてに対する修正を実行する必要がある場合、インスタンスとしての
複数のクラスベースアプリケーションモジュール1、2、3、および4(クラスベースAPM1、A
PM2、APM3、およびAPM4)のうちの一部またはすべてからエンジニアリングテンプレートと
してのクラスモジュール1(CM1)をリンク解除する必要があり、それによって、複数のクラ
スベースアプリケーションモジュール1、2、3、および4(クラスベースAPM1、APM2、APM3
、およびAPM4)のうちの一部またはすべては、各クラスレスインスタンスに対して個々に
修正を実行する前に、複数のクラスレスアプリケーションモジュール1、2、3、および4(
クラスレスAPM1、APM2、APM3、およびAPM4)になる。これらのプロセスは複雑で時間がか
かり、エラーが生じやすい。
【００５８】
　要するに、エンジニアは、一般に設計情報の汎用制御論理を含むソースエンジニアリン
グテンプレート(ソース親)を作成し、次いで、ソースエンジニアリングテンプレート(ソ
ース親)に基づいてエンジニアリングデータの子インスタンスとしての変更および/または
構成を行う。
【００５９】
　ソースエンジニアリングテンプレートおよび子インスタンスとしてのエンジニアリング
データは、後で試験されシステムプロジェクトに展開される。試験時に、エンジニアリン
グデータは、顧客の追加の要件をサポートするように変更する必要がある。エンジニアは
、そのような要件に応じて、通常、子インスタンスに対する変更を更新する必要がある。
【００６０】
　その結果、テンプレートと子インスタンスとの間の関係が破壊され、エンジニアリング
テンプレートの再使用可能性が無効になる。リンクが破壊された後、インスタンスは、ソ
ーステンプレートを有さないクラスレスアプリケーションモジュールになり、エンジニア
は、更新を個々に実行する必要がある。さらに、リンケージが破壊されると、既存の論理
の一部も影響を受ける。
【００６１】
[エンジニアリングテンプレートを分岐させるクラスベース/グループクラスベースモジュ
ールエンジニアリング]
　再使用可能性およびエンジニアリング効率を改善するには、既存のエンジニアリングテ
ンプレートまたはソースエンジニアリングテンプレートから1つまたは複数の新しいエン
ジニアリングテンプレート(新しい親)を分岐させるための分岐プロセスが有効である。エ
ンジニアは、既存のテンプレートから新しいエンジニアリングテンプレート(新しい親)を
分岐させてもよい。エンジニアは、分岐グループクラスモジュール対話を介したユーザの
選択による分岐時にどのエンジニアリングデータを子インスタンスとして含めるべきかを
選択することができる。分岐が成功した後、それぞれの子インスタンスは、新しい親を参
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照し、それによって、エンジニアは、子インスタンス上で直接更新するのではなく新しい
エンジニアリングテンプレート上で追加のデータを構成することができる。
【００６２】
　具体的には、モジュールベースエンジニアリングでは、グループクラスモジュールをエ
ンジニアリングテンプレートとして理解することができ、エンジニアリングテンプレート
は、設計情報と、アタッチメントリストと、割振りとを含む。各グループクラスモジュー
ルは、複数のクラスモジュールと、フォルダと、それらの階層とからなる。
【００６３】
　各グループクラスモジュールは、1つまたは複数のグループアプリケーションモジュー
ル(グループAPM)にインスタンス化することができる。各グループアプリケーションモジ
ュール(グループAPM)はまた、設計情報と、アタッチメントと、割振りとを含む。同様に
、各クラスモジュールは、クラスベースアプリケーションモジュール(クラスベースAPM)
としてインスタンス化され、クラスベースアプリケーションモジュールは、テンプレート
からの制御論理、チューニングパラメータ、アラーム属性と、設計情報およびアタッチメ
ントを含む。
【００６４】
　設計情報は、モジュールの設計がワード文書に公開される場合がある文書生成機能にお
いて使用される。
【００６５】
　アタッチメントは、クラスモジュールに関する関連アーチファクトを記憶するために使
用される。アーチファクトは任意のバイナリファイルとすることができる。
【００６６】
　制御論理は、プロセス制御の論理情報を含む。制御論理のコンテンツは、制御図面およ
び機能ブロック詳細定義を設計するためのコンテンツである。
【００６７】
　アラーム属性のコンテンツは、機能ブロックのアラーム属性および動作ステーション(H
IS)用のアラームシステムにおいて取り扱われるアラーム属性を設計するためのコンテン
ツである。
【００６８】
　チューニングパラメータのコンテンツは、制御関連チューニングパラメータの設計値を
設計するためのコンテンツである。
【００６９】
　各グループクラスモジュールは、1)設計情報と、2)アタッチメントと、3)割振りとで構
成される。設計情報およびアタッチメントは、クラスモジュールの場合と同様の機能であ
り、ドキュメンテーションの対象とされ、一方、割振りは、複合ループを定義するために
クラスモジュールのグループ化および複数の制御図面へのクラスモジュールの割当てを定
義する。
【００７０】
　子クラスモジュールは、クラスモジュールへのショートカットを含む。子クラスモジュ
ールは、グループモジュールにおける複合ループの論理を定義して形成する。
【００７１】
　グループクラスモジュールは、それ自体のトポロジーを定義して制御および/または機
器モジュールまたはユニットについての論理構造を表す。
【００７２】
[ソースエンジニアリングテンプレートをインスタンス化した後にソースエンジニアリン
グテンプレートを分岐させるための分岐プロセス]
　分岐プロセスは、1)1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエンジニア
リングテンプレートを複製して、ソースエンジニアリングテンプレートにおける1つまた
は複数のソース子テンプレートからインスタンス化された1つまたは複数の子インスタン
スを含むインスタンスを複製することなしに、それぞれ、1つまたは複数のソース子テン
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プレートに対応する1つまたは複数の複製子テンプレートを有する複製エンジニアリング
テンプレートを作成することであって、複製エンジニアリングテンプレートがインスタン
スを有さず、1つまたは複数の子インスタンスの各々が、ソースエンジニアリングテンプ
レートへの元のリンクを有する、複製して作成することと、2)ソースエンジニアリングテ
ンプレートからインスタンス化された1つまたは複数の子インスタンスから少なくとも1つ
の子インスタンスを選択することであって、選択された少なくとも1つの子インスタンス
が、ソースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを有する、選択することと、3)
元のリンクを選択された少なくとも1つの子インスタンスと複製エンジニアリングテンプ
レートとの間の新しいリンクに変更することであって、選択された少なくとも1つの子イ
ンスタンスが、複製エンジニアリングテンプレートへの新しいリンクを有し、ソースエン
ジニアリングテンプレートへの元のリンクを有さず、選択されない1つまたは複数の子イ
ンスタンスが、ソースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを保持する、変更す
ることとを行うためのプロセスを指す。複製プロセスは、1つまたは複数のソース子テン
プレートを有するソースエンジニアリングテンプレートをインスタンス化して、各々が1
つまたは複数の子インスタンスを有する1つまたは複数のインスタンスを作成した後に実
行される。場合によっては、テンプレートは、限定はしないが、クラスモジュールまたは
グループクラスモジュールであってもよい。
【００７３】
　さらに、複製エンジニアリングテンプレートをインスタンス化して、複製エンジニアリ
ングテンプレートからの1つまたは複数の子インスタンスを有する追加のインスタンスを
作成するための追加のインスタンス化プロセスであって、1つまたは複数の子インスタン
スが複製エンジニアリングテンプレートへのリンクを有する、追加のインスタンス化プロ
セスが実行される。
【００７４】
　図3は、ソースエンジニアリングテンプレートをインスタンス化した後にソースエンジ
ニアリングテンプレートを分岐させるための分岐プロセスの全体的な概念の例示的な例の
概略図である。
【００７５】
　第1に、1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエンジニアリングテンプ
レート「テンプレートA」を作成するためのエンジニアリングテンプレート作成プロセス
であって、1つまたは複数のソース子テンプレートの各々がソースエンジニアリングテン
プレートへのショートカットまたはソースエンジニアリングテンプレートの参照を有する
、エンジニアリングテンプレート作成プロセスが実行される。
【００７６】
　第2に、1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエンジニアリングテンプ
レート「テンプレートA」をインスタンス化して、ソースエンジニアリングテンプレート
「テンプレートA」における1つまたは複数のソース子テンプレートから1つまたは複数の
子インスタンス「子インスタンス1」および「子インスタンス2」を各々が有する1つまた
は複数のソースインスタンスを作成するインスタンス化プロセスが実行される。
【００７７】
　第3に、以下の3つのサブプロセスを含む分岐プロセスが実行される。
【００７８】
　1つまたは複数のソース子テンプレートを有するソースエンジニアリングテンプレート
を複製して、ソースエンジニアリングテンプレート「テンプレートA」における1つまたは
複数のソース子テンプレートからインスタンス化された1つまたは複数の子インスタンス
「子インスタンス1」および「子インスタンス2」を複製することなしに、それぞれ、1つ
または複数のソース子テンプレートに対応する1つまたは複数の複製子テンプレートを有
する複製エンジニアリングテンプレート「テンプレートA'」を作成するための、第1の分
岐サブプロセスとしての複製プロセスであって、複製エンジニアリングテンプレート「テ
ンプレートA'」がインスタンスを有さず、1つまたは複数の子インスタンスの各々は、ソ
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ースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを有する複製プロセスが実行される。
すなわち、ソースエンジニアリングテンプレートを複製して複製エンジニアリングテンプ
レート「テンプレートA'」を作成した直後には、複製エンジニアリングテンプレート「テ
ンプレートA'」はインスタンスを有さず、1つまたは複数の子インスタンスの各々は、ソ
ースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを有する。
【００７９】
　ソースエンジニアリングテンプレート「テンプレートA」における1つまたは複数のソー
ス子テンプレートからインスタンス化された1つまたは複数の子インスタンス「子インス
タンス1」および「子インスタンス2」から少なくとも1つの子インスタンスを選択するた
めの、第2の分岐サブプロセスとしての選択プロセスであって、複製エンジニアリングテ
ンプレート「テンプレートA'」がインスタンスを有さず、選択された少なくとも1つのイ
ンスタンスがソースエンジニアリングテンプレートへの元のリンクを有する選択プロセス
が実行される。
【００８０】
　元のリンクを選択された少なくとも1つの子インスタンスと複製エンジニアリングテン
プレートとの間の新しいリンクに変更するための、第3の分岐サブプロセスとしてのリン
ク変更プロセスであって、選択された少なくとも1つの子インスタンスが、複製エンジニ
アリングテンプレートへの新しいリンクを有し、ソースエンジニアリングテンプレートへ
の元のリンクを有さず、選択されない1つまたは複数の子インスタンスがソースエンジニ
アリングテンプレートへの元のリンクを保持するリンク変更プロセスが実行される。リン
ク変更プロセスは、選択された少なくとも1つまたは複数の子インスタンスとソースエン
ジニアリングテンプレートとのリンクを解除するためのサブプロセスと、その後、選択さ
れた少なくとも1つまたは複数の子インスタンスを複製エンジニアリングテンプレートと
リンクするためのサブプロセスの2つのサブプロセスを含んでもよい。
【００８１】
　第4に、複製エンジニアリングテンプレート「テンプレートA'」をインスタンス化して
、複製エンジニアリングテンプレート「テンプレートA'」から1つまたは複数の子インス
タンスを有する追加のインスタンス「子インスタンス3」を作成するための追加のインス
タンス化プロセスであって、1つまたは複数の子インスタンスが、複製エンジニアリング
テンプレート「テンプレートA'」へのリンクを有する追加のインスタンス化プロセスが実
行される。
【００８２】
　上述のように、分析プロセスは、ソースエンジニアリングテンプレート(ソースエンジ
ニアリング「テンプレートA」)を複製することだけでなく、エンジニアがインスタンスま
たは子アプリケーションモジュール(子AMP)などのアプリケーションモジュールを選択す
るのを可能にすることと、複製エンジニアリングテンプレート(「テンプレートA'」)と選
択されたインスタンスまたは子アプリケーションモジュール(子AMP)との間のリンケージ/
関係を自動的に生成することと、子インスタンス(「子インスタンス1」および「子インス
タンス2」)を破壊または分離するのを可能にすることも含む。具体的には、子インスタン
ス1(「子インスタンス1」)はソースエンジニアリングテンプレート(「テンプレートA」)
とともにとどまり、一方、子インスタンス2(「子インスタンス2」)には、複製エンジニア
リングテンプレート(「テンプレートA'」)にリンクすることが選択される。
【００８３】
　その結果、それぞれソースエンジニアリングテンプレート「A」および新しい複製エン
ジニアリングテンプレート「A'」にリンクされた子インスタンス(「子インスタンス1」お
よび「子インスタンス2」)に対する修正は、互いに影響を与えることなしに分離される。
これに対して、現在の分岐プロセスを実行しない場合、ソースエンジニアリングテンプレ
ート「A」にリンクされた子インスタンス(「子インスタンス1」および「子インスタンス2
」)に対する修正は互いに関係付けられ、互いに影響し合う。したがって、分岐プロセス
が利用可能でない場合、第1のステップとして、ソースエンジニアリングテンプレート(テ
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ンプレートA)と修正目標子インスタンス(「子インスタンス2」)との間のリンケージを、
修正目標子インスタンス(「子インスタンス2」)に修正を施す前に破壊しておく必要があ
る。これに対して、分岐プロセスが利用可能である場合、ソースエンジニアリングテンプ
レート「A」が複製されて新しい複製エンジニアリングテンプレート「A'」が作成され、
子インスタンス(「子インスタンス2」)とソースエンジニアリングテンプレート「A」との
リンクが、リンケージを破壊する代わりに、子インスタンス(「子インスタンス2」)と新
しい複製エンジニアリングテンプレート「A'」との新しいリンクに変更され、それによっ
て、修正目標子インスタンス(「子インスタンス2」)は依然としてクラスベースであり、
依然として複製エンジニアリングテンプレートA'とのリンケージを有し、一方、他の修正
目標子インスタンスすなわち非修正目標子インスタンスはクラスベースであり、依然とし
てソースエンジニアリングテンプレート「A」とのリンケージを有する。複製エンジニア
リングテンプレートA'にリンクされた修正目標子インスタンス(「子インスタンス2」)は
インスタンス化されなくてもよい。したがって、エンジニアリング作業を著しく低減させ
ることができる。しかし、新しい子インスタンスまたは追加の子インスタンスが必要であ
る場合、複製エンジニアリングテンプレートA'を任意にインスタンス化して、ソースエン
ジニアリングテンプレート「A」に影響を与えずに複製エンジニアリングテンプレートA'
にリンクされた新しい追加の子インスタンスを作成することができる。
【００８４】
[グループクラスモジュールの分岐]
　拡張するグループクラスモジュール(グループCM)のうちで、1つのグループクラスモジ
ュールがソースグループクラスモジュール(ソースグループCM)として選択され、このソー
スグループクラスモジュールが複製されて、1つまたは複数の新しい複製グループクラス
モジュールが作成される。選択されたグループクラスモジュールは、以下ではソースグル
ープクラスモジュール(ソースグループCM)と呼ばれる。ソースグループクラスモジュール
(ソースグループCM)から1つまたは複数の新しい複製グループクラスモジュールが作成さ
れた後、エンジニアまたはユーザは、リンク生成ツールを使用することができ、ソースグ
ループクラスモジュール(ソースグループCM)からインスタンス化されソースグループクラ
スモジュール(ソースグループCM)にリンクされたグループアプリケーションモジュール(
グループAPM)から、新しい複製グループクラスモジュール(複製グループCM)とリンクすべ
き1つまたは複数のグループアプリケーションモジュール(グループAPM)を選択することが
できる。エンジニアまたはユーザはリンク生成ツールを使用することができ、エンジニア
またはユーザが1つまたは複数のグループアプリケーションモジュール(グループAPM)を選
択するのを可能にするように構成される。リンク生成ツールは、選択された1つまたは複
数のグループアプリケーションモジュール(グループAPM)をソースグループクラスモジュ
ール(ソースグループCM)からリンク解除し、選択された1つまたは複数のグループアプリ
ケーションモジュール(グループAPM)を、ソースグループクラスモジュール(ソースグルー
プCM)から複製された新しい複製グループクラスモジュール(複製グループCM)にリンクす
るように構成される。リンク生成ツールは、エンジニアまたはユーザによる選択時に、選
択された1つまたは複数のグループアプリケーションモジュール(グループAPM)のリンク解
除およびリンクを自動的に実行するように構成される。リンク生成ツールは、選択された
1つまたは複数のグループアプリケーションモジュール(グループAPM)と新しい複製グルー
プクラスモジュール(複製グループCM)との間に新しいリンクを自動的に生成するように構
成される。
【００８５】
　複製および選択後に、元はソースグループクラスモジュール(ソースグループCM)にリン
クされていたインスタンス化されたグループアプリケーションモジュール(グループAPM)
は、ソースグループクラスモジュールではなく、複製グループクラスモジュール(複製グ
ループCM)を参照するかまたは複製グループクラスモジュールにリンクすることができる
ようになる。具体的には、複製グループクラスモジュール(複製グループCM)と対応する選
択されたグループアプリケーションモジュール(グループAPM)との間のリンケージ/リンク
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が自動的に生成され、オートメーションエンジニアリングシステムのサーバであるデータ
ベースに記憶される。
【００８６】
　エンジニアは、新しいエンジニアリングテンプレート(新しい親)と呼ばれる複製グルー
プクラスモジュール(複製グループCM)上で直接エンジニアリングデータを変更し構成して
もよい。新しいエンジニアリングテンプレートに基づいて作成されるインスタンスに変更
を施すにはモジュール更新プロセスを実行する必要がある。モジュール更新の詳細につい
ては後で説明する。上記のようにして、新しい複製テンプレート上に変更を保存すること
ができ、グループクラスモジュール(グループCM)などのエンジニアリングテンプレートの
再使用可能性が向上する。同様のプロジェクトがある場合、エンジニアは、様々な設計要
件に基づいて、ソースグループクラスモジュール(ソースグループCM)などの既存のテンプ
レートまたは複製グループクラスモジュール(複製グループCM)などの新しい複製テンプレ
ートを再使用してもよい。
【００８７】
　上述の分岐プロセスは、以下の利点の組を実現する。
【００８８】
　分岐プロセスは、同じプロジェクト上の複数のチームによる分離同時作業を可能にする
。
【００８９】
　分岐プロセスは、リンク解除後に各インスタンスを個々に更新する際にヒューマンエラ
ーが生じる危険性を低減させる。これらのエラーは、子インスタンスなどのエンジニアリ
ングデータに様々なセットの変更が直接施されることによって生じる。
【００９０】
　分岐プロセスは、顧客のいくつかの要件に基づいて様々なエンジニアリングテンプレー
ト上での以後の分離された変更を効果的にサポートし、既存の論理のうちのいくつかを分
岐させることができ、したがって、工場受入試験(FAT)などのいくつかの必須の試験時ま
たはエンジニアリングフェーズの間にいくつかの変更が必要になる場合にエンジニアリン
グ作業負荷を低減させる。
【００９１】
　分岐プロセスは、データリリースを可能にし、顧客から直ちにフィードバックを得る。
【００９２】
　様々なエンジニアリングテンプレート上でエンジニアリング作業を分析させ実行するこ
とによって、既存の論理のいくつかは影響を受けない。
【００９３】
　上記の説明はグループクラスモジュールの分岐の場合についての説明であるが、分岐プ
ロセスはクラスモジュールに適用することができる
【００９４】
[クラスモジュールの分岐]
　分岐プロセスはクラスモジュールに適用することができる。ユーザによってクラスモジ
ュールを複製することができ、このことは、1つのソースクラスモジュールに基づいて複
数のクラスモジュールを作成できることを意味する。ユーザは、任意の利用可能なユーザ
インターフェースを使用して、たとえば、どのクラスベースアプリケーションモジュール
(クラスベースAPM)、どの子クラスモジュール(子CM)および/または子アプリケーションモ
ジュール(子APM)をソースクラスモジュールの代わりに複製クラスモジュールとリンクす
べきかを選択することができる。
【００９５】
　複製および選択の後で、元はソースクラスモジュール(ソースCM)にリンクされていた選
択されたクラスベースアプリケーションモジュール(クラスベースAPM)、子クラスモジュ
ール、および/または子アプリケーションモジュール(子APM)は、ソースクラスモジュール
ではなく、新しい複製クラスモジュールを参照することができ、または新しい複製クラス
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モジュールとリンクすることができる。具体的には、「複製クラスモジュール」と対応す
る選択されたクラスベースアプリケーションモジュールAPM、子クラスモジュール、およ
び/または子アプリケーションモジュール(子APM)との間のリンケージ/リンクが自動的に
生成され、オートメーションエンジニアリングシステムのサーバなどのデータベースに記
憶される。リンク生成構成要素はまた、複製クラスモジュールと選択されたクラスベース
アプリケーションモジュール(クラスベースAPM)、子クラスモジュール、および/または子
アプリケーションモジュール(子APM)との間にリンクを生成するように構成される。
【００９６】
　エンジニアは、複製クラスモジュール上で直接エンジニアリングデータを変更し構成す
ることができる。そのようにして、加えられた変更は新しい複製エンジニアリングテンプ
レート上に保存され、クラスモジュール(CM)などのエンジニアリングテンプレートの再使
用可能性が向上する。同様のプロジェクトがある場合、エンジニアは、設計要件に基づい
て、ソースクラスモジュール(ソースCM)などの既存のテンプレートまたは新しい複製テン
プレート(複製CM)を再使用することができる。
【００９７】
　分岐プロセスに関する以下の例示的な例について、図4および図5を参照して説明する。
図4は、グループクラスモジュールを分岐させるためのプロセスを示す概略図である。図5
は、図4のグループクラスモジュールを分岐させるためのプロセスの後でレガシークラス
モジュールを分岐させるためのプロセスを示す概略図である。
【００９８】
　図4に示すように、グループクラスモジュールを分岐させるための分岐グループクラス
モジュール対話が起動され、ディスプレイスクリーンにウィンドウ「グループクラスモジ
ュール(GCM1)の分岐」が示される。ユーザは、分岐グループクラスモジュール対話を起動
する前に、クラスモジュールライブラリナビゲータにおいてクラスモジュール(CM1、CM2)
を作成しておく。さらに、ユーザは、グループクラスモジュールライブラリナビゲータに
おいてグループクラスモジュール(GCM1)を作成しており、グループクラスモジュール(GCM
1)は、それぞれクラスモジュール(CM1、CM2)へのショートカットを有する子クラスモジュ
ール(CCM1、CCM2)を有する。さらに、ユーザは、グループクラスモジュール(GCM1)をイン
スタンス化して2つのグループアプリケーションモジュール(GAPM1、GAMP2)をアプリケー
ション構造ナビゲータにおけるインスタンスとして作成している。グループアプリケーシ
ョンモジュール(GAPM1、GAPM2)の各々は、それぞれクラスモジュール(CM1、CM2)にリンク
された2つの子アプリケーションモジュール(APM1、APM2)を有する。すなわち、子アプリ
ケーションモジュール(APM1、APM2)は、それぞれクラスモジュール(CM1、CM2)にリンクさ
れる。
【００９９】
　分岐グループクラスモジュール対話の第1のステップでは、ユーザは、新しいグループ
クラスモジュールの分岐グループクラスモジュール名を入力する。新しいグループクラス
モジュールは、ディスプレイスクリーン上のウィンドウ内のテキストボックス「新しいグ
ループクラスモジュール名」(301)においてソースグループクラスモジュール(GCM1)を複
製することによって作成される。この例では、分岐グループクラスモジュール名は、グル
ープクラスモジュール2を意味する「GCM2」である。このテキストボックスは、分岐グル
ープクラスモジュールの名前、または分岐に使用される作成された複製グループクラスモ
ジュールの名前を入力するために使用され、この場合、デフォルト値は空である。
【０１００】
　この状態では、グループクラスモジュール(GCM1)を分岐させるためのプロセスが実行さ
れ、グループクラスモジュール(GCM1)の複製である新しい複製グループクラスモジュール
(GCM2)が作成される。新しい複製グループクラスモジュール(GCM2)は、クラスモジュール
(CM1、CM2)へのショートカットを有する子クラスモジュール(CCM1、CCM2)を有する。新し
い複製グループクラスモジュール(GCM2)の子クラスモジュール(CCM1、CCM2)は、グループ
クラスモジュール(GCM1)の子クラスモジュール(CCM1、CCM2)と同じである。
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【０１０１】
　分岐グループクラスモジュール対話の第2のステップでは、すべてのリンクされたグル
ープアプリケーションモジュール(グループAPM)、たとえば、選択されたグループクラス
モジュールの(GAPM1、GAPM2)が、グリッドコントロール(302)における行として示される
。グリッドコントロール(302)は、リンクされたグループアプリケーションモジュール(グ
ループAPM)の情報を含む。グリッドコントロール(302)は、ユーザがリンクされたグルー
プアプリケーションモジュール(グループAPM)のうちのどれを分岐プロセスに含めるべき
かを選択するのを可能にし、ユーザは、チェックボックスコラムヘッダを使用してグリッ
ドコントロール(302)内の行を選択し選択解除することができる。
【０１０２】
　リンクされたグループアプリケーションモジュール(グループAPM)のうちのどれを分岐
プロセスに含めるべきかについてのユーザの選択に基づいて、選択されたグループアプリ
ケーションモジュール(GAPM2)が新しい複製グループクラスモジュール(GCM2)に自動的に
リンクされ、新しい複製グループクラスモジュール(GCM2)はもはやグループクラスモジュ
ール(GCM1)にリンクされない。グループアプリケーションモジュール(GAPM)の「パス」パ
ス/位置をアプリケーション構造ナビゲータにおいて参照することができる。
【０１０３】
　図5に示すように、レガシークラスモジュールを分岐させるための分岐レガシークラス
モジュール対話が起動され、ウィンドウ「レガシーグループクラスモジュール(CM3)の分
岐」がディスプレイスクリーンに示される。
【０１０４】
　分岐レガシークラスモジュール対話の第1のステップでは、ユーザは、新しいクラスモ
ジュールの分岐レガシークラスモジュール名を入力する。新しいクラスモジュールは、デ
ィスプレイスクリーン上のウィンドウ内のテキストボックス「新しいクラスモジュール名
」(401)においてレガシークラスモジュール(CM2)を複製することによって作成される。こ
の例では、分岐クラスモジュール名は、クラスモジュール3を意味する"CM3"である。この
テキストボックスは、分岐クラスモジュールの名前、または分岐に使用される作成された
複製クラスモジュールの名前を入力するために使用され、この場合、デフォルト値は空で
ある。
【０１０５】
　この状態では、クラスモジュール(CM2)を分岐させるためのプロセスが実行され、クラ
スモジュール(CM2)の複製である新しい複製クラスモジュール(CM3)が作成される。
【０１０６】
　分岐クラスモジュール対話の第2のステップでは、すべてのリンクされた子クラスモジ
ュール(GCM1のCCM2、GCM2のCCM2)、および子クラスモジュール(CCM2)についてリンクされ
た子クラスモジュール(GCM1のCCM2、GCM2のCCM2)を参照する子アプリケーションモジュー
ル、すなわち、GAPM1の子AMP2(CM2)およびGAPM2の子APM2(CM2)が、グリッドコントロール
(402)における行として示される。グリッドコントロール(402)は、クラスベースアプリケ
ーションモジュール(クラスベースAPM)および/または子クラスモジュール(CCM2)ならびに
子アプリケーションモジュール、すなわち、子クラスモジュールにリンクされた子APM(40
3)の情報を含む。子アプリケーションモジュール、すなわち、子APM(403)は、別個の列に
おける補足情報として示される。
【０１０７】
　グリッドコントロール(402)は、ユーザがクラスベースアプリケーションモジュール(ク
ラスベースAPM)および/または子クラスモジュールならびにそれらのモジュールを参照す
る子アプリケーションモジュール(子APM)のうちのどれを分岐プロセスに含めるべきかを
選択するのを可能にし、具体的には、このことは、チェックボックスを選択してグリッド
コントロール(402)における行を選択/選択解除することによって完了することができる。
【０１０８】
　どの子クラスモジュール(たとえば、GCM2のCCM2)と子クラスモジュールについてのどの
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子アプリケーションモジュール(子APM2)とを一緒に分岐プロセスに含めるべきかについて
のユーザの選択に基づいて、子クラスモジュール(たとえば、GCM2のCCM2)と子クラスモジ
ュールの子アプリケーションモジュール(子APM2)が自動的にリンクされて新しい複製クラ
スモジュール(CM3)が得られ、新しい複製クラスモジュール(CM3)はもはやクラスモジュー
ル(CM2)にはリンクされない。子アプリケーションモジュール(子APM)の「パス」パス/位
置は、アプリケーション構造ナビゲータにおいて参照することができる。言い換えれば、
選択された子クラスモジュールおよび選択された子クラスモジュールを参照するかまたは
選択された子クラスモジュールに対応する子アプリケーションモジュールAPMは同時に、
分岐できるように構成される。
【０１０９】
　上述の分岐プロセッサは、グループクラスモジュールだけでなくクラスモジュールにも
適用することができる。
【０１１０】
　図6は、クラスモジュールを分岐させるためのプロセスを示す概略図である。図6に示す
ように、クラスモジュールを分岐させるための分岐クラスモジュール対話が起動され、デ
ィスプレイスクリーンにウィンドウ「クラスモジュールの分岐」が示される。ユーザは、
分岐クラスモジュール対話を起動する前に、クラスモジュールライブラリナビゲータにお
いてクラスモジュール(CMA)を作成している。さらに、ユーザは、グループクラスモジュ
ールライブラリナビゲータにおいてグループクラスモジュール(GCM1)を作成しており、グ
ループクラスモジュール(GCM1)は、クラスモジュール(CMA)へのショートカットを有する
子クラスモジュール(AAA)を有する。さらに、ユーザは、クラスモジュール(CMA)をインス
タンス化して、アプリケーション構造ナビゲータにおいて2つのクラスベースアプリケー
ションモジュール(CBAPM1、CBAPM2)をインスタンスとして作成している。さらに、ユーザ
は、アプリケーション構造ナビゲータにおいて2つのグループアプリケーションモジュー
ル(GAPM1、GAPM2)をインスタンスとして作成しており、グループアプリケーションモジュ
ール(GAPM1)は、クラスモジュール(CMA)へのショートカットを有する子アプリケーション
モジュール(子APMAAA)を有し、ならびにグループアプリケーションモジュール(GAPM2)も
、クラスモジュール(CMA)へのショートカットを有する子アプリケーションモジュール(子
APMAAA)を有する。さらに、ユーザは、グループクラスモジュール(GCM1)を複製してグル
ープクラスモジュールライブラリナビゲータにおいて新しい複製グループクラスモジュー
ル(GCM2)を作成しており、新しい複製グループクラスモジュール(GCM2)は、クラスモジュ
ール(CMA)へのショートカットを有する2つの子クラスモジュール(BBB、CCC)を有する。次
いで、ユーザは、新しい複製グループクラスモジュール(GCM2)をインスタンス化してアプ
リケーション構造ナビゲータにおいてグループアプリケーションモジュール(GAPM3)をイ
ンスタンスとして作成しており、グループアプリケーションモジュール(GAPM3)は、クラ
スモジュール(CMA)へのショートカットを有する2つの子アプリケーションモジュール(子A
PMBBB、子APMCCC)を有する。
【０１１１】
　分岐クラスモジュール対話の第1のステップにおいて、ユーザは、新しいクラスモジュ
ールの分岐クラスモジュール名を入力する。新しいクラスモジュールは、ディスプレイス
クリーン上のウィンドウ内のテキストボックス「新しいクラスモジュール名」においてソ
ースクラスモジュール(CMA)を複製することによって作成される。この例では、新しいク
ラスモジュール名は"CMB"である。このテキストボックスは、分岐クラスモジュールの名
前、または分岐に使用される作成された複製クラスモジュールの名前を入力するために使
用され、デフォルト値は空である。
【０１１２】
　この状態では、クラスモジュール(CMA)を分岐させるためのプロセスが実行され、新し
い複製クラスモジュール(CMB)が作成される。新しい複製クラスモジュール(CMB)は、図6
には示されておらず、クラスモジュール(CMA)の複製である。
【０１１３】
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　分岐グループクラスモジュール対話の第2のステップでは、クラスベースアプリケーシ
ョンモジュール(CBAPM)、たとえば、クラスベースアプリケーションモジュール(CBAPM1)
、クラスベースアプリケーションモジュール(CBAPM2)、子クラスモジュール、すなわち、
GCM1の子クラスモジュール(AAA)、GCM2の子クラスモジュール(BBB)および子クラスモジュ
ール(CCC)、ならびに子クラスモジュールを参照する子アプリケーションモジュールが、
グリッドコントロールにおける行として示される。グリッドコントロールは、リンクされ
たクラスベースアプリケーションモジュール(CBAPM)、グループクラスモジュールの子ク
ラスモジュール(グループCM)、および子クラスモジュールを参照する子APMの情報を含む
。グリッドコントロールは、ユーザが、リンクされたクラスベースアプリケーションモジ
ュール(CBAPM)、グループクラスモジュールの子クラスモジュール(グループCM)、および/
または子クラスモジュールを参照する子APMのうちのどれを分岐プロセスに含めるべきか
を選択するのを可能にし、ユーザは、チェックボックスコラムヘッダを使用してグリッド
コントロールにおける行を選択し選択解除することができる。
【０１１４】
　リンクされたクラスベースアプリケーションモジュール、グループクラスモジュール(
グループCM)の子クラスモジュール、および子クラスモジュールを参照する子APMのうちの
どれを分岐プロセスに含めるべきかについてのユーザの選択に基づいて、選択されたクラ
スベースアプリケーションモジュール(すなわち、(1)CBAPM1)、子クラスモジュール(すな
わち、(3)AAA、(8)CCC)、およびAAAの子APM、すなわち、(4)GAPM1の子APMAAAおよび(5)GA
PM2の子APMAAA、ならびにCCCの子APM、すなわち、(9)GAPM3の子APMCCCが自動的にリンク
されて新しい複製クラスモジュール(CMB)が得られ、新しい複製クラスモジュール(CMB)は
、もはやクラスモジュール(CMA)にはリンクされない。クラスベースアプリケーションモ
ジュール(CBAPM1)およびグループアプリケーションモジュール(GAPM)の「パス」パス/位
置は、アプリケーション構造ナビゲータにおいて参照することができる。
【０１１５】
　クラスモジュールおよび/またはグループクラスモジュールを分岐させるための上述の
分岐プロセスは、プラントエンジニアリングシステムにおけるグループモジュールベース
エンジニアリングシステムにおいて実施することができる。上記の説明は、グループクラ
スモジュールおよびクラスモジュールなどのエンジニアリングテンプレートを分岐させる
ための分岐プロセスを対象としている。以下の説明は、上述の分岐プロセスと組み合わせ
て同じくエンジニアリングプロセスのために実行される他のプロセスを対象とする。上述
の分岐プロセス以外のプロセスは、インスタンス化プロセス、更新プロセス、およびバイ
ンディングプロセスを含んでもよい。上記で簡単に説明したように、上述の分岐プロセス
は、更新プロセスについての実際の作業を低減させ、元のテンプレートの再使用可能性が
向上する。
【０１１６】
[クラスモジュールおよびグループクラスモジュールを使用したモジュールベースエンジ
ニアリング]
　工業プラントのオートメーション設計についてのクラスモジュールベースエンジニアリ
ングにおけるモジュール分岐プロセスの最も重要な機能のうちの1つは、再使用可能性の
向上である。試験済みのクラスモジュールおよび/またはグループクラスモジュールを再
使用すると、エンジニアリング品質を向上させ、エンジニアリング時間および試験時間を
短縮することができ、試験済みのクラスモジュールおよび/またはグループクラスモジュ
ールは、一部が修正され、一部が再使用される。
【０１１７】
　図面についてのクラスモジュールをインスタンス化指向のクラスモジュールベースオブ
ジェクトの特性および振る舞いに関してグループ化することによって、モジュールベース
エンジニアリングの適用範囲が制御モジュール図面、機器モジュール図面、および/また
はユニット図面の複合ループに拡張される。モジュールベースエンジニアリングの再使用
可能性に関する値は大幅に増大する。複合ループを有する制御モジュール図面については
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エクスポートおよびインポートを行うことができる。複合ループを有する制御モジュール
図面は、インスタンス化してフィールド制御システムなどの物理デバイスに割り当てるこ
とができる。図7は、グループクラスモジュールベースエンジニアリングに基づいて階層
アーキテクチャに編成されたプラント制御システムにおける様々な機器を参照する工業プ
ラントの階層を示すブロック図である。グループモジュールベースエンジニアリングの場
合、グループクラスモジュールは、制御モジュールレベルまたは最低レベルで再使用可能
であるだけでなく、機器モジュールレベルおよびユニットモジュールレベルなどのより高
いレベルでも再使用可能である。グループクラスモジュールを使用することによるグルー
プクラスモジュールエンジニアリングの適用範囲は、最低レベルすなわち制御モジュール
レベルだけでなく、機器モジュールレベルおよびユニットレベルも包含する。グループク
ラスモジュールは、複数の図面の範囲を有する。工業用途では、典型的なループは、制御
モジュール、機器モジュール、および/またはユニットの複数の図面を有することがある
。グループクラスモジュールを使用することによるモジュールエンジニアリングの適用範
囲は、制御モジュール、機器モジュール、および/またはユニットの複数の図面の複合ル
ープを包含する。
【０１１８】
　グループクラスモジュールは、柔軟に全体的または部分的にインスタンス化されてもよ
く、それによって、ユーザは図面の高度に複合構造を作成することができるだけでなく、
制御モジュール図面のより単純な構造を柔軟にインスタンス化することができる。グルー
プクラスモジュールのインスタンス化は、トップダウンもしくはボトムアップ手法、また
は制御モジュール図面、機器モジュール図面、および/もしくはユニット図面の任意の複
合構造からの単なる抽出であってもよい。トップダウン手法は、たとえば、限定はしない
が、ユニット、機器モジュール、および制御モジュールの順番のモジュール開発であって
もよい。ボトムアップ手法は、たとえば、限定はしないが、制御モジュール、機器モジュ
ール、およびユニットの順番のモジュール開発であってもよい。
【０１１９】
　グループクラスモジュールは、インスタンス化することができるクラスベースでオブジ
ェクト指向のような特性および振る舞いの一部を固守するように設計されてもよい。各グ
ループクラスモジュールは、クラスが別のクラスをその特性および/またはフィールドと
して含むかまたは参照するのと同様に、クラスモジュールのショートカットまたは参照で
ある1つまたは複数の子クラスモジュールを含んでもよい。グループクラスモジュールは
、クラス継承などのオブジェクト指向のクラスのすべての特性に適用できるとは限らない
。このことは、クラスモジュールを別のクラスモジュールまたはグループクラスモジュー
ル、ポリモーフィズムなどから継承するかまたはバイアスさせることは不可能であること
を意味する。
【０１２０】
　図8は、制御モジュールレベル、機器モジュールレベル、および/またはユニットレベル
で再使用可能なグループクラスモジュールを使用するグループモジュールベースエンジニ
アリングシステムを含むプラントエンジニアリングシステムを示すブロック図である。プ
ラントエンジニアリングシステム50000は、グループモジュールエンジニアリングシステ
ム51000と、制御ネットワーク52000と、複数の物理フィールドコントローラ53000と、フ
ィールドネットワーク54000と、複数のフィールドデバイス55000と、制御システム56000
とを含む。制御システム56000は、システムエンジニアリングデータベース56100を有する
。制御システム56000は、イーサネット(登録商標)などの任意の利用可能なネットワーク
を介してグループモジュールエンジニアリングシステム51000に接続される。制御システ
ム56000は、制御ネットワーク52000を介して複数の物理フィールドコントローラ53000に
接続される。複数のフィールドデバイス55000はフィールドネットワーク54000に接続され
、フィールドネットワーク54000は複数の物理フィールドコントローラ53000にさらに接続
され、それによって、複数の物理フィールドコントローラ53000は複数のフィールドデバ
イス55000を制御する。
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【０１２１】
　グループモジュールエンジニアリングシステム50000は、グループモジュールエンジニ
アリングエディタ51000を含む。グループモジュールエンジニアリングエディタ51000は、
ライブラリナビゲータ51100と、アプリケーション構造ナビゲータ51200と、システム構造
51300と、グループモジュールインスタンス化エンジン51400と、グループモジュール更新
エンジン51500と、グループモジュールバインディングエンジン51600とを含む。ライブラ
リナビゲータ51100は2つの異なる種類のナビゲーショナルライブラリ、たとえば、クラス
モジュールライブラリ51110およびグループクラスモジュールライブラリ51120を有する。
クラスモジュールライブラリ51110は、再使用可能クラスモジュールをクラスベースエン
ジニアリングテンプレートとして含む。各クラスモジュールは、設計情報と、アタッチメ
ントと、制御論理と、アラーム属性と、チューニングパラメータとを含む。グループクラ
スモジュールライブラリ51120は、再使用可能グループクラスモジュールをグループクラ
スベースエンジニアリングテンプレートとして含む。
【０１２２】
　アプリケーション構造ナビゲータの階層を制御システムのプラント階層に反映してモジ
ュールエンジニアリングの適用範囲を拡張可能にすべきである。
【０１２３】
　クラスモジュールライブラリ51110は、再使用可能モジュールエンジニアリングデータ(
制御論理、アラームパラメータ、およびチューニングパラメータ)ならびにドキュメンテ
ーション(設計情報およびアタッチメント)を含むクラスモジュールの定義を含む。各クラ
スモジュールは、1)説明情報、2)アタッチメント、3)制御論理、4)アラーム属性、および
5)チューニングパラメータから構成される。
【０１２４】
　グループクラスモジュールライブラリ51120は、複数の制御図面にバインドされたより
複合ループを形成するためのクラスモジュールのグループ化を含むグループクラスモジュ
ールの定義を含む。
【０１２５】
　設計情報は、モジュールの設計がワード文書に公開される場合がある文書生成機能にお
いて使用される。
【０１２６】
　アタッチメントは、クラスモジュールに関する関連するアーチファクトを記憶するため
に使用される。アーチファクトは、任意のバイナリファイルとすることができる。
【０１２７】
　制御論理はプロセス制御の論理情報を含む。制御論理のコンテンツは、制御図面および
機能ブロック詳細定義を設計するためのコンテンツである。
【０１２８】
　アラーム属性のコンテンツは、機能ブロックのアラーム属性および動作ステーション(H
IS)用のアラームシステムにおいて取り扱われるアラーム属性を設計するためのコンテン
ツである。
【０１２９】
　チューニングパラメータのコンテンツは、制御関連チューニングパラメータの設計値を
設計するためのコンテンツである。
【０１３０】
　各グループクラスモジュールは、1)設計情報と、2)アタッチメントと、3)割振りとで構
成される。設計情報およびアタッチメントは、クラスモジュールの場合と同様の機能であ
り、ドキュメンテーションの対象とされ、一方、割振りは、複合ループを定義するために
クラスモジュールのグループ化および複数の制御図面へのクラスモジュールの割当てを定
義する。
【０１３１】
　子クラスモジュールは、クラスモジュールへのショートカットを含む。子クラスモジュ
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ールは、グループモジュールにおける複合ループの論理を定義して形成する。
【０１３２】
　グループクラスモジュールは、それ自体のトポロジーを定義して制御および/または機
器モジュールまたはユニットについての論理構造を表す。
【０１３３】
(グループモジュールライブラリ)
　各グループクラスモジュールは、複合構造を有する。各グループクラスモジュールは、
設計情報と、アタッチメントと、割振りとを含む。各グループクラスモジュールは1つま
たは複数のクラスフォルダを有してもよい。クラスフォルダは、グループクラスモジュー
ルまたはグループクラスモジュールにおける別のクラスフォルダの下位に作成することが
でき、それによって、クラスフォルダは、1つもしくは複数の子クラスモジュールまたは1
つもしくは複数の他のクラスフォルダを含んでもよい。各グループクラスモジュールはま
た、1つまたは複数の子クラスモジュールを有してもよい。図8は、グループクラスモジュ
ールの複合構造の一例を示す。ここで、フォルダ1などのクラスフォルダはグループクラ
スモジュール1に属する。グループクラスモジュール1は、それぞれ複数のクラスモジュー
ル1、2、---nに関連付けられた複数の子クラスモジュール1、2、---nを含む。この例では
、子クラスモジュール1はクラスフォルダ1に属する。他の残りの子クラスモジュール2、3
、---nは共通的にグループクラスモジュール1に属する。グループクラスモジュールと通
常クラスモジュールとの違いの1つは、グループクラスモジュールが割振りと、それぞれ
クラスモジュールに関連付けられた複数の子クラスモジュールとを含むことである。グル
ープクラスモジュールおよび複数の子クラスモジュールについての割振りによって、適用
範囲が拡張され、グループクラスモジュールベースエンジニアリングの適用範囲を最低階
層レベルの制御モジュール図面の規則的な単純ループだけでなく、より高い階層レベル、
たとえば機器レベルおよびユニットレベルにおける図面の複合ループも包含することがで
きる。
【０１３４】
　第1に、ユーザはグループクラスモジュールライブラリ51120におけるグループクラスモ
ジュールを作成する。ユーザは、次いで、グループクラスモジュールの下位にクラスフォ
ルダと子クラスモジュールを作成する。子クラスモジュールは、レガシークラスモジュー
ルへのショートカットファイルである。
【０１３５】
　エンジニアリングテンプレートとしてのグループクラスモジュールにおける割振りは、
制御モジュール図面についてのモジュールグループ化情報を含む。割振りは、少なくとも
2つ、すなわち、1)クラスモジュールのグループ化、および2)制御モジュール、機器モジ
ュール、および/またはユニットの複数の図面へのクラスモジュールの割当てを定義して
、複数の論理図面の複合ループ構造を定義する。グループアプリケーションモジュールに
ついての別の種類の割振りがあり、これについては後述する。ここでは、複数の論理図面
の複合ループ構造についてのエンジニアリングテンプレートとしてのグループクラスモジ
ュールにおける割振りについて説明する。
【０１３６】
　それぞれの複数の子クラスモジュールは、複数のグループクラスモジュールの関連する
グループクラスモジュールに属する。各子クラスモジュールは、複数のクラスモジュール
の関連するクラスモジュールを参照するそれぞれのショートカットファイルを含む。それ
ぞれの複数の子クラスモジュールは、関連するグループクラスモジュールに属し、関連す
るグループクラスモジュールにおける複合ループの論理を定義して形成する。
【０１３７】
　エンジニアリングテンプレートとしてのグループクラスモジュールに属する子クラスモ
ジュールは、クラスモジュールライブラリ51110における複数のクラスモジュールのクラ
スモジュールを参照するそれぞれのショートカットファイルを含む。子クラスモジュール
が参照するクラスモジュールは、子クラスモジュールについてのレガシークラスモジュー
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ルである。エンジニアリングテンプレートとしてのグループクラスモジュールは、ユーザ
が各子クラスモジュールのインスタンス化または非インスタンス化を選択するのを可能に
する。言い換えれば、エンジニアリングテンプレートとしてのグループクラスモジュール
は、ユーザが1つまたは複数の子クラスモジュールをインスタンス化しないモジュールと
して選択し、残りの子クラスモジュールをインスタンス化するモジュールとして選択する
のを可能にする。レガシークラスモジュールに対する修正は、レガシークラスモジュール
を参照しレガシークラスモジュールからインスタンス化される1つまたは複数の子クラス
モジュールのすべてに直接反映される。これによって、モジュール保全性がある程度向上
する。1つまたは複数の子クラスモジュールが参照するレガシークラスモジュールはエク
スポート可能でありかつインポート可能である。グループクラスモジュールは、グループ
クラスモジュールごとにチェックアウト/チェックインされる。各子クラスモジュールを
独立にチェックアウト/チェックインすることはできない。各子クラスモジュールはレガ
シークラスモジュールから削除することができる。レガシークラスモジュールに追加の子
クラスモジュールを追加することができ、追加の子クラスモジュールは、レガシークラス
モジュールを参照するショートカットファイルを有する。各子クラスモジュールのショー
トカットファイルは、クラスがその特性および/またはフィールドとして別のクラスを含
むかまたは参照するのと同様にレガシークラスモジュールを参照することができる。グル
ープクラスモジュールベースエンジニアリングの場合、レガシークラスモジュールを参照
する複数の子クラスモジュールがグループクラスモジュールの複合ループの論理を定義し
形成するので、子クラスモジュールが必要である。
【０１３８】
　グループクラスモジュールは、それ自体のトポロジーを制御モジュール図面、機器モジ
ュール図面、および/またはユニット図面についての論理構造を表すように定義すること
ができる。
【０１３９】
　機能仕様などの設計情報は、モジュール構成要素として定義されてもよい。設計情報は
一般に、モジュールの詳細について説明するテキスト、画像、テーブルを含んでもよい。
制御論理は、制御図面と、機能ブロック、スイッチ、およびメッセージの詳細な定義とを
含んでもよい。制御論理は、クラスモジュールまたはアプリケーションモジュールにおい
て定義されてもよい。モジュールベースエンジニアリングは、フィールド制御システムの
制御論理において定義された機能ブロックにおけるチューニングパラメータ設計値のバル
ク編集により、かつチューニングパラメータ設計値およびフィールド制御システムの現在
の値を比較し設定することによって、チューニングパラメータをモジュール構成要素と見
なすことを可能にする。アラーム属性は、アラーム設定値およびアラーム優先順位であっ
てもよい。任意のファイルをモジュール構成要素として付加することができる。アタッチ
メントのリストは、単純な動作によって起動することができる。
【０１４０】
(グループクラスモジュールのインスタンス化)
　図8に示すように、モジュールエンジニアリングエディタ51000はグループモジュールイ
ンスタンス化エンジン51400を含む。グループモジュールインスタンス化エンジン51400は
、選択された子クラスモジュールのユーザ構成に基づいてグループアプリケーションモジ
ュール(グループAPM)を作成する。子クラスモジュールのうちのいくつかを、導出された
グループアプリケーションモジュール(グループAPM)から除外することが可能である。こ
れによって、エンジニアまたはユーザは、グループモジュールについてのモジュールエン
ジニアリングデータをフェーズごとに構成することができる。
【０１４１】
　グループモジュールインスタンス化エンジン51400は、グループクラスモジュールおよ
びグループクラスモジュールライブラリ51120内の子クラスモジュール1、2、---nをイン
スタンス化して、アプリケーション構造ナビゲータ51200においてインスタンスおよびイ
ンスタンスに属する子インスタンスを生成するように構成される。グループモジュールイ
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ンスタンス化エンジン51400によってグループクラスモジュール1から作成されるかまたは
インスタンス化されるインスタンスは、インスタンスとしてのグループアプリケーション
モジュール1および2(グループAPM2、グループAPM2)およびアプリケーションフォルダ1を
含む。アプリケーションフォルダ1はグループアプリケーションモジュール1(グループAPM
1)に属する。ここで、部分的なインスタンス化の結果として、グループアプリケーション
モジュール2(グループAPM2)には、インスタンス化されていないグループクラスモジュー
ルライブラリ51120内の子クラスモジュール1を含むアプリケーションフォルダ1をクラス
フォルダ1として含めないことが可能である。
【０１４２】
　グループアプリケーションモジュール1および2(グループAPM1、グループAPM2)はあるプ
ロジェクト(PJT)に属する。グループクラスモジュールライブラリ51120内の子クラスモジ
ュール1、2、---nからグループモジュールインスタンス化エンジン51400によって作成さ
れるかまたはインスタンス化される子インスタンスは、子アプリケーションモジュール1
、2、---nの第1のセットならびに子アプリケーションモジュール2、---nの第2のセットを
含む。子アプリケーションモジュール1、2、---nの第1のセットはグループアプリケーシ
ョンモジュール1(グループAPM1)に属し、子アプリケーションモジュール1は、グループア
プリケーションモジュール1(グループAPM1)に属するアプリケーションフォルダ1に属する
。他の子アプリケーションモジュール2、---nは、直接グループアプリケーションモジュ
ール1(グループAPM1)に属する。子アプリケーションモジュール1、2、---nの第1のセット
はそれぞれクラスモジュール1、2、---nに関連付けられる。子アプリケーションモジュー
ル2、---nの第2のセットは、直接グループアプリケーションモジュール2(グループAPM2)
に属する。子アプリケーションモジュール2、---nの第2のセットはそれぞれクラスモジュ
ール2、---nに関連付けられる。
【０１４３】
　グループアプリケーションモジュール1および2(グループAPM1、グループAPM2)の各々は
、設計情報と、アタッチメントと、割振りとを含む。グループアプリケーションモジュー
ル1(グループAPM1)の割振りは、グループクラスモジュールの割振りからの単なるサブセ
ットであってもよい。グループアプリケーションモジュール1および2(グループAPM1、グ
ループAPM2)の各々における割振りは、制御モジュール図面、機器モジュール図面、およ
び/またはユニット図面についてのモジュールグループ化情報を含んでもよい。グループ
アプリケーションモジュール1および2(グループAPM1、グループAPM2)の各々における割振
りは、少なくとも2つ、すなわち、1)グループアプリケーションモジュール1および2のグ
ループ化、ならびに2)複数の論理図面の複合ループ構造を定義するための制御モジュール
、機器モジュール、および/またはユニットの複数の図面へのグループアプリケーション
モジュール1および2の割当てを定義する。
【０１４４】
　さらに、グループモジュールインスタンス化エンジン51400は、クラスモジュールライ
ブラリ51110内のクラスモジュール1、2、---nをインスタンス化して、それぞれクラスモ
ジュール1、2、---nに関連付けられたクラスベースアプリケーションモジュール1、2、--
-nを生成するように構成される。クラスベースアプリケーションモジュールを生成した後
、クラスベースアプリケーションモジュールをグループモジュール更新エンジン51500に
よって更新することができ、それによって、クラスベースアプリケーションモジュールと
クラスモジュールとの間の関連付けが破壊され、クラスベースアプリケーションモジュー
ルがクラスモジュールから独立し、その結果、クラスベースアプリケーションモジュール
はクラスレスアプリケーションモジュールになる。
【０１４５】
　図8に示すように、子アプリケーションモジュール1、2、---n、クラスベースアプリケ
ーションモジュールn、およびクラスレスアプリケーションモジュールの各々は、設計情
報と、制御論理と、チューニングパラメータと、アラーム属性と、アタッチメントとを含
む。機能仕様などの設計情報は、モジュール構成要素として定義されてもよい。設計情報
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は一般に、モジュールの詳細について説明するテキスト、画像、および表を含んでもよい
。制御論理は、制御図面、ならびに機能ブロック、スイッチ、およびメッセージの詳細な
定義を含んでもよい。制御論理は、クラスモジュールまたはアプリケーションモジュール
において定義されてもよい。モジュールベースエンジニアリングは、フィールド制御シス
テムの制御論理において定義された機能ブロックにおけるチューニングパラメータ設計値
のバルク編集により、かつチューニングパラメータ設計値およびフィールド制御システム
の現在の値を比較し設定することによって、チューニングパラメータをモジュール構成要
素と見なすことを可能にする。アラーム属性は、アラーム設定値およびアラーム優先順位
であってもよい。任意のファイルをモジュール構成要素として付加することができる。ア
タッチメントのリストは、単純な動作によって起動することができる。
【０１４６】
　モジュールエンジニアリングエディタ51000は、グループモジュール更新エンジン51500
をさらに含む。グループモジュール更新エンジン51500は、グループアプリケーションモ
ジュール1および2(グループAPM1、グループAPM2)ならびにクラスベースアプリケーション
モジュール(クラスベースAPM)を更新するように構成される。モジュールエンジニアリン
グエディタ51000は、モジュールバインディングエンジン51600を含む。モジュールバイン
ディングエンジン51600は、グループアプリケーションモジュール1(グループAPM1)に属す
るアプリケーションモジュール1および2(子APM1、子APM2)を制御図面"DRXXXX"にバインド
し、また、別のインスタンス、子アプリケーションモジュール(子APM3)を別の制御図面"D
RYYYY"にバインドするように構成される。同様に、モジュールバインディングエンジン51
600は、クラスベースアプリケーションモジュール(クラスベースAPM)とクラスレスアプリ
ケーションモジュール(クラスレスAPM)の両方をさらに別の制御図面"DRZZZZ"にバインド
するように構成される。システム構造51300における制御図面"DRXXXX"、"DRYYYY"、およ
び"DRZZZZ"は、エンジニアリングデータに変換され、エンジニアリングデータはシステム
エンジニアリングデータベース56100に記憶される。図5に示すように、グループクラスモ
ジュールおよびクラスモジュールからインスタンス化されたアプリケーションモジュール
は、モジュールバインディングエンジン51600によって複数の制御図面にバインドされ、
制御モジュール図面、機器モジュール図面、および/またはユニット図面の複合ループを
定義する。エンジニアリング適用範囲を機器モジュールおよび/またはユニットレベルに
拡張した結果、工業制御についてのエンジニアリング効率は著しく改善されている。
【０１４７】
　上述のように、グループクラスモジュールライブラリ51120内のグループクラスモジュ
ールおよび子クラスモジュールの階層は、グループモジュールインスタンス化エンジン51
400によるグループクラスモジュールライブラリ51120におけるグループクラスモジュール
および子クラスモジュールのインスタンス化時にアプリケーション構造ナビゲータ51200
に反映される。ユーザは、モジュールライブラリ51110内のクラスモジュールのグループ
化を構成してグループクラスモジュールライブラリ51120においてグループクラスモジュ
ールを生成する。ユーザがクラスモジュールのグループ化を構成する理由は、このグルー
プ化を後のプロセス、すなわち、インスタンス化後のモジュールバインディングにおいて
使用するからである。ユーザは、クラスモジュールのグループ化を構成し、グループクラ
スモジュールライブラリ51120においてグループクラスモジュールを生成した後、インス
タンス化を実行し、グループアプリケーションモジュール(グループAPM)およびその階層
が、ユーザがアプリケーション構造ナビゲータ51200において指定した位置に作成される
。グループクラスモジュールからインスタンス化されたインスタンスはグループアプリケ
ーションモジュール(グループAPM)と呼ばれる。子クラスモジュールからインスタンス化
されたインスタンスは子アプリケーションモジュール(子APM)と呼ばれる。ユーザは、イ
ンスタンス化を実行する際、インスタンス化すべきでない1つまたは複数の子クラスモジ
ュールを選択するか、または、言い換えれば、インスタンス化すべき子クラスモジュール
を選択する。ユーザは、同じグループクラスモジュールをそれぞれに異なる選択肢によっ
て1つまたは複数の子アプリケーションモジュール(子APM)にインスタンス化することがで
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きる。この部分的なインスタンス化によって、たとえば、1つまたは複数の子アプリケー
ションモジュール(子APM)の第1のセットを有する第1のグループアプリケーションモジュ
ールと、1つまたは複数の子アプリケーションモジュール(子APM)の第2のセットを有する
第2のグループアプリケーションモジュールが生成されてもよく、1つまたは複数の子アプ
リケーションモジュール(子APM)の第1のセットは、1つまたは複数の子アプリケーション
モジュール(子APM)の第2のセットとは異なる。グループモジュールインスタンス化エンジ
ン51400は、選択された子クラスモジュールのユーザ構成に基づいてグループアプリケー
ションモジュール(グループAPM)を作成するように構成される。子クラスモジュールのう
ちのいくつかを、導出されたグループアプリケーションモジュール(グループAPM)から除
外することが可能である。これによって、エンジニアは、グループモジュールについての
モジュールエンジニアリングデータをフェーズごとに構成することができる。モジュール
エンジニアリングエディタ51000は、グループクラスモジュールの適用可能なインスタン
スを作成してユーザがテンプレートグループクラスモジュールを再使用するのを可能にす
るための処理系を含む。
【０１４８】
　設計情報は、グループアプリケーションモジュール(グループAPM)によってコピーされ
ることもまたは継承されることもない。設計情報は、その現実世界の用途、設計、および
目的または具体的な用途、設計、および目的について説明するための設計情報自体のドキ
ュメンテーションを有してもよい。アタッチメントは、グループアプリケーションモジュ
ール(グループAPM)によってコピーされることもまたは継承されることもない。アタッチ
メントは、その現実世界の用途、設計、および目的または具体的な用途、設計、および目
的について説明するためのアタッチメント自体のドキュメンテーションを有してもよい。
グループアプリケーションモジュール(グループAPM)の割振りは、どの子クラスモジュー
ルがインスタンス化されるかに応じてグループクラスモジュールの割振りからの単なるサ
ブセットであってもよい。
【０１４９】
　ユーザは、グループクラスモジュールのインスタンス化にどの子クラスモジュールを含
めるべきかを選択する。
【０１５０】
　それぞれの子アプリケーションモジュール(子APM)1、2、および3は通常、1)設計情報と
、2)アタッチメントと、3)制御論理と、4)アラーム属性と、5)チューニングパラメータと
を有する。
【０１５１】
　アプリケーション構造ナビゲータ51200内の子アプリケーションモジュール1(子APM1)に
おける設計情報とクラスモジュールライブラリ51110内のクラスモジュール1における設計
情報の間には違いがある。
【０１５２】
　アプリケーション構造ナビゲータ51200内の子アプリケーションモジュール1(子APM1)に
おけるアタッチメントとクラスモジュールライブラリ51110内のクラスモジュール1におけ
るアタッチメントの間には違いがある。
【０１５３】
　いくつかの編集可能なフィールドにおいて、アプリケーション構造ナビゲータ51200内
の子アプリケーションモジュール(子APM1)における制御論理とクラスモジュールライブラ
リ51110内のクラスモジュール1における制御論理の間には違いがある。
【０１５４】
　いくつかの編集可能なフィールドにおいて、アプリケーション構造ナビゲータ51200内
の子アプリケーションモジュール1(子APM1)におけるアラーム属性とクラスモジュールラ
イブラリ51110内のクラスモジュール1におけるアラーム属性の間には違いがある。
【０１５５】
　いくつかの編集可能なフィールドにおいて、アプリケーション構造ナビゲータ51200内
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の子アプリケーションモジュール1(子APM1)におけるチューニングパラメータとクラスモ
ジュールライブラリ51110内のクラスモジュール1におけるチューニングパラメータの間に
は違いがある。
【０１５６】
　単にソースグループクラスモジュールからのインスタンス化によってモジュールエンジ
ニアリングデータをトポロジーおよびコンテンツに関して再使用し、さらにエンジニアリ
ングの労力を最小限に抑えるために、グループアプリケーションモジュール1(グループAP
M1)およびグループアプリケーションモジュール2(グループAPM2)はグループクラスモジュ
ール1から作成される。依然としていくつかの編集可能なパラメータを構成する必要があ
る。クラスベースアプリケーションモジュール(クラスベースAPM)はソースクラスモジュ
ールを有し、クラスレスアプリケーションモジュール(クラスレスAPM)は、ソースクラス
モジュールを参照しない。
【０１５７】
　図9は、グループクラスモジュール、およびグループクラスモジュールから部分的にイ
ンスタンス化された2つのグループアプリケーションモジュールの一例を示す。割振りは
、クラスモジュールのグループ化、および複合ループを定義するための複数の制御図面へ
のクラスモジュールの割当てを定義する。一例として、ライブラリ内のグループクラスモ
ジュール「ABCD_UNIT」は、グループAPM「UNIT_0001(ABCD_UNIT)」またはグループAPM「U
NIT_0002(ABCD_UNIT)」としてインスタンス化されている。ユーザは、部分的なインスタ
ンス化を実行するための設計ニーズおよび/または設計フェーズに応じてインスタンス化
すべきでないグループクラスモジュールの下位の子クラスモジュールを選択することがで
きる。たとえば、図6に示すように、グループクラスモジュール「ABCD_UNIT」の子クラス
モジュール「BBB(CM_2)」はグループAPM「UNIT_0001(ABCD_UNIT)」ではインスタンス化さ
れていない。
【０１５８】
　最後に、論理制御図面は、グループクラスモジュールにおいて構成されたが、物理フィ
ールド制御システム33000の制御図面に割り当てられる。場合によっては、同じグループ
クラスモジュールの下位のグループアプリケーションモジュール(グループAPM)は、同じ
物理フィールド制御システム33000に割り当てられるべきである。複数の子クラスモジュ
ールからレガシークラスモジュールが参照されるとき、レガシークラスモジュールについ
ての修正は複数の子クラスモジュールに直接反映され、それによってモジュール保全性が
向上する。
【０１５９】
(制御図面用のグループアプリケーションモジュールのバインド)
　図8に示すように、モジュールエンジニアリングエディタ51000はモジュールバインディ
ングエンジン51600を含む。モジュールバインディングエンジン51600は、グループアプリ
ケーションモジュール1(グループAPM1)に属する子アプリケーションモジュール1および2(
子APM1、子APM2)を制御図面「DRXXXX」にバインドし、また、別のインスタンス、子アプ
リケーションモジュール(子APM3)を別の制御図面「DRYYYY」にバインドするように構成さ
れる。同様に、モジュールバインディングエンジン51600は、子APM、すなわち、グループ
APM2の子APM2、クラスベースアプリケーションモジュール(クラスベースAPM)とクラスレ
スアプリケーションモジュール(クラスレスAPM)の両方をさらに別の制御図面「DRZZZZ」
にバインドするように構成される。モジュールバインディングエンジン51600の機能は、
子アプリケーションモジュール(子APM)間の関係を維持することである。レガシーアプリ
ケーションモジュール(レガシーAPM)は任意の図面に独立にバインドすることができ、レ
ガシーアプリケーションモジュール(レガシーAPM)にはグループ化も制限も適用されない
。グループアプリケーションモジュール(グループAPM)Group APMでは、割振り情報は、子
アプリケーションモジュール(子APM)にグループ化をあらかじめ割り当てて、子アプリケ
ーションモジュール(子APM)を同じ制御図面に割り当てさせる。
【０１６０】
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(インスタンス化後のグループクラスモジュールの更新)
　グループモジュール更新エンジン51500は、グループクラスモジュールからのトポロジ
ーおよび割振りデータの変更を、グループアプリケーションモジュール(グループAPM)に
ついてのグループクラスモジュールの適用可能なインスタンスに同期させるために使用さ
れる。グループモジュール更新エンジン51500は、グループアプリケーションモジュール1
および2のループ構造におけるトポロジーおよび1つまたは複数の目標グループアプリケー
ションモジュール1および/または2のトポロジーを更新して、グループアプリケーション
モジュール1および2のトポロジーの更新を、1つまたは複数の目標グループアプリケーシ
ョンモジュール1および/または2のトポロジーに同期させるかまたは反映するように構成
される。グループモジュール更新エンジン51500は、各グループクラスモジュールの割振
りおよびグループクラスモジュールライブラリ51120内の各グループクラスモジュール1の
複合ループのそれぞれのトポロジーを更新するように構成される。グループモジュール更
新エンジン51500は、目標グループアプリケーションモジュール1または2(目標グループAP
M1またはグループAPM2)の割振りおよび目標グループアプリケーションモジュール1または
2(目標グループAPM1またはグループAPM2)の複合ループのそれぞれのトポロジーを更新す
るように構成される。グループモジュール更新エンジン51500は、どのグループアプリケ
ーションモジュールおよびループ構造におけるグループアプリケーションモジュールのト
ポロジーを目標グループアプリケーションモジュール(目標グループAPM)に反映しなけれ
ばならないかを特定するか、またはユーザが特定するのを可能にするように構成される。
言い換えれば、グループモジュール更新エンジン51500は、グループクラスモジュールの
ループ構造におけるトポロジーの更新による変更または修正を目標グループアプリケーシ
ョンモジュール(目標グループAPM)のループ構造におけるトポロジーに反映するために使
用される。
【０１６１】
　上述のように、各グループクラスモジュールは複合ループ構造を有する。グループクラ
スモジュールには複合更新管理が必要である。上述のように、各グループクラスモジュー
ルは設計情報と、アタッチメントリストと、割振りとを有する。同じく上述のように、各
グループアプリケーションモジュール(グループAPM)は、設計情報と、アタッチメントリ
ストと、割振りとを有する。設計情報とアタッチメントは別個の定義であり、インスタン
ス化またはモジュール更新時には更新されない。「更新」という用語は、変更、修正、追
加、および削除のためのプロセスを指す。グループクラスモジュールのループ構造におけ
るトポロジーの更新による変更または修正を目標グループアプリケーションモジュール(
目標グループAPM)のループ構造におけるトポロジーに反映するためのプロセスは、1)目標
グループアプリケーションモジュール(目標グループAPM)のループ構造におけるトポロジ
ーを更新すること、2)1つまたは複数の子アプリケーションモジュールが属する目標グル
ープアプリケーションモジュール(目標グループAPM)に1つまたは複数の子アプリケーショ
ンモジュールを追加するかまたは目標グループアプリケーションモジュール(目標グルー
プAPM)から1つまたは複数の子アプリケーションモジュールを削除すること、および3)1つ
または複数の子アプリケーションモジュールのコンテンツの3つのステップを含んでもよ
い。
【０１６２】
　グループモジュール更新エンジン51500は、グループアプリケーションモジュール(グル
ープAPM)内に子アプリケーションモジュール(子APM)が存在することおよびソース子クラ
スモジュールの位置に対する変更に基づいて、グループクラスモジュールおよびグループ
アプリケーションモジュール(グループAPM)のトポロジー間の更新を実行するように構成
される。グループモジュール更新エンジン51500は、グループクラスモジュールのすでに
作成された適用可能なインスタンスをその新しいバージョンによって更新するための処理
系を含む。
【０１６３】
　インスタンス化後のグループクラスモジュールの更新についてより詳細に説明し、すな
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わち、再使用可能性、チェックアウト/イン、コンテンツ、更新、およびグループ化解除
に関して説明する。
【０１６４】
　図10は、グループクラスモジュールおよびグループアプリケーションモジュールについ
ての更新管理の一例を示す。インスタンス化後に、グループクラスモジュールの下位にお
いてクラスモジュール「AAA」が削除された場合、モジュール更新がトリガされならびに/
または実行されているときには、グループクラスモジュールのインスタンスAPM_1がアプ
リケーション構造の下位の対応するグループAPMから削除される。グループモジュールの
下位においてクラスモジュールEEE(CM_1)が追加された場合、クラスモジュールEEE(CM_1)
は別個のインスタンスウィンドウ対話を使用してインスタンス化され、APM_5(CM_1)とし
てインスタンス化される。エンジニアまたはユーザは、アプリケーション構造の下位のク
ラスAPMを削除し、たとえば、APM_4を削除することができるが、この削除(DDD(CM_2)によ
ってAPM_4のソースクラスモジュールが削除されることはない。
【０１６５】
再使用可能性:
　グループクラスモジュールは2段階でエクスポートおよび/またはインポートを行うこと
ができる。第1に、子クラスモジュールによって参照されるレガシークラスモジュールが
エクスポートならびに/またはインポートされる。第2に、グループクラスモジュールがエ
クスポートならびに/またはインポートされる。再使用可能なモジュールエンジニアリン
グデータの、他のシステムプロジェクトのエンジニアリングデータベースへのエクスポー
トおよびインポートを行うことができ、それによって、他のシステムプロジェクトはこの
エンジニアリングデータを再使用することができる。
【０１６６】
チェックアウトおよび/またはチェックイン
　チェックアウトおよび/またはチェックインのためのプロセスは、グループクラスモジ
ュールに属するすべての子クラスモジュールを含むグループクラスモジュール全体ごとに
実行することができる。すなわち、各子クラスモジュールの独立したチェックアウトおよ
び/またはチェックインを行うことはできない。これに対して、グループアプリケーショ
ンモジュール(グループAPM)については、グループアプリケーションモジュール(グループ
APM)のみまたは子アプリケーションモジュール(子APM)との組合せごとにチェックアウト
および/またはチェックインのプロセスを実行することができる。すなわち、各子アプリ
ケーションモジュール(子APM)の独立したチェックアウトおよび/またはチェックインを行
うことができる。
【０１６７】
コンテンツ
　上述のように、グループクラスモジュールは、そのグループクラスモジュールについて
の設計情報と、アタッチメントリストと、割振りとを有する。同じく上述のように、グル
ープアプリケーションモジュール(グループAPM)は設計情報と、アタッチメントと、割振
りとを有する。設計情報とアタッチメントは別個の定義であり、インスタンス化またはモ
ジュール更新プロセス時には更新されない。この振る舞いはレガシーモジュールの振る舞
いと同じである。
【０１６８】
更新
　上述のように、インスタンス化後にグループクラスモジュールが修正される場合、以下
の3段階で修正をグループアプリケーションモジュール(グループAPM)に反映することがで
きる。
　1)グループAPMトポロジーの更新
　2)子APMの追加および/または削除
　3)子APMコンテンツの更新
【０１６９】
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　第1に、グループクラスモジュールについてモジュール更新マネージャが起動される。
次いで、グループアプリケーションモジュール(グループAPM)のトポロジーおよび割振り
が、モジュール更新マネージャによって更新される。グループアプリケーションモジュー
ル(グループAPM)は、グループクラスモジュールが修正される場合、ユーザの選択および/
またはユーザによるトリガによって更新される。グループクラスモジュールを更新するこ
とによって子クラスモジュールが削除される場合、対応する子アプリケーションモジュー
ル(子APM)が削除される。この段階では、すべての子アプリケーションモジュール(子APM)
のチェックアウトおよび/またはチェックインを行わなければならない。
【０１７０】
　第2に、1つまたは複数の子クラスモジュールが追加される場合、追加された子クラスモ
ジュールはインスタンスリストウィンドウにおいてインスタンス化される。1つまたは複
数の子アプリケーションモジュール(子APM)を削除する必要がある場合、1つまたは複数の
子アプリケーションモジュール(子APM)は、アプリケーション構造ナビゲータにおいて削
除される。
【０１７１】
　最後に、子クラスモジュールによって参照されるレガシークラスモジュールが更新され
、それによって、子アプリケーションモジュール(子APM)のコンテンツが更新される。
【０１７２】
グループAPMのグループ解除
　ユーザは、グループアプリケーションモジュール(グループAPM)の「グループ解除」を
実行することができる。グループ解除は、グループ化のプロセスとは逆のプロセスを指す
。グループアプリケーションモジュール(グループAPM)をグループ解除すると、ループ構
造が破壊され、各アプリケーションモジュールがアプリケーション構造におけるプロジェ
クトフォルダとしての最上位のフォルダの直下に配置される。「グループ解除」のための
プロセスの後、グループアプリケーションモジュール(グループAPM)の最上位のフォルダ
がアプリケーションフォルダになり、最上位のフォルダの直下の設計情報およびアタッチ
メントリストが削除され、子アプリケーションモジュール(子APM)が、それぞれのクラス
モジュールを指すクラスベースアプリケーションモジュール(クラスベースAPM)になる。
【０１７３】
　図11は、グループアプリケーションモジュール(グループAPM)についてのモジュール更
新のサンプルシナリオを示す。この節ではグループAPMについてのモジュール更新の具体
的な例について説明する。図11は、グループAPM EQUIP1を有するグループクラスモジュー
ルGM0001の一例を示す。このグループアプリケーションモジュール(グループAPM)は、グ
ループクラスモジュールに属する3つの子クラスモジュールのうちの2つによって部分的に
作成される。
【０１７４】
アプリケーション設定
　以下に、グループクラスモジュールおよびグループAPMからの割振り設定のための構成
を示す。
【０１７５】
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【表１】

【表２】

【０１７６】
モジュールバインディング
　これは、グループ番号1がFCS0101→DR0001にバインドされることを表すグループAPMの
モジュールバインディング状態を示す。
【０１７７】
【表３】

【０１７８】
　以下の表に、ユーザシナリオおよびモジュール更新を実行した結果が与えられた場合の
モジュール更新対話のステータスを表す。
【０１７９】
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【表４Ａ】
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【表４Ｂ】
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【表４Ｃ】

【０１８０】



(40) JP 2020-155102 A 2020.9.24

10

20

30

40

50

　要するに、上述の実施形態から、工業プラントのオートメーション設計についてのグル
ープクラスモジュールベースエンジニアリングの最も重要な機能の1つが再使用可能性の
向上であることを諒解することができる。試験済みのグループクラスモジュールを再使用
するとエンジニアリング品質を向上させ、エンジニアリング時間および試験時間を短縮す
ることができ、試験済みのグループクラスモジュールは部分的に修正され部分的に再使用
される。
【０１８１】
　上述のゲーム装置についての各要素またはデバイスは、ハードウェアとソフトウェアに
よって実装することも、またはソフトウェアなしでハードウェアによって実装することも
できる。場合によっては、ゲーム装置は、1つまたは複数のハードウェアプロセッサおよ
び1つまたは複数のソフトウェア構成要素によって実装されてもよく、その場合、1つまた
は複数のソフトウェア構成要素は、ゲーム装置についての各要素またはデバイスを実装す
るように1つまたは複数のハードウェアプロセッサによって実行される。いくつかの他の
場合には、ゲーム装置は、ゲーム装置についての各要素またはデバイスの各動作を実行す
るように構成された回路のシステムまたは回路によって実装されてもよい。
【０１８２】
　上述の実施形態におけるシステムおよび方法は、コンピュータソフトウェア、ソフトウ
ェア構成要素、プログラムコード、および/または1つもしくは複数のプロセッサに対する
命令を実行するマシンまたは回路によって部分的または全体的に展開されてもよい。1つ
または複数のプロセッサは、汎用コンピュータ、サーバ、クラウドサーバ、クライアント
、ネットワークインフラストラクチャ、モバイルコンピューティングプラットフォーム、
固定コンピューティングプラットフォーム、または他のコンピューティングプラットフォ
ームの一部であってもよい。1つまたは複数のプロセッサは、プログラム命令、コード、
バイナリ命令などを実行することができる任意の種類の計算または処理デバイスであって
もよい。1つまたは複数のプロセッサは、信号プロセッサ、デジタルプロセッサ、組込み
プロセッサ、マイクロプロセッサ、または記憶されたプログラムコードもしくはプログラ
ム命令の実行を直接的もしくは間接的に容易にすることがあるコプロセッサ、たとえば数
値演算コプロセッサ、グラフィックコプロセッサ、通信コプロセッサなどの任意の変形例
であってもよく、またはそれらを含んでもよい。さらに、1つまたは複数のプロセッサは
、複数のプログラム、スレッド、およびコードの実行を可能にしてもよい。各スレッドは
、1つまたは複数のプロセッサの実行を向上させ、アプリケーションの同時動作を容易に
するように同時に実行されてもよい。本明細書で説明するプログラムコード、プログラム
命令などは、1つまたは複数のスレッドにおいて実施されてもよい。1つまたは複数のプロ
セッサは、本明細書で説明するようにコード、命令、およびプログラムを記憶するメモリ
を含んでもよい。プロセッサは、本明細書および他の部分で説明するようにコード、命令
、およびプログラムを記憶する場合がある非一時的プロセッサ可読記憶媒体にインターフ
ェースによってアクセスしてもよい。プログラム、コード、プログラム命令、またはコン
ピューティングデバイスもしくは処理デバイスによって実行することができる他の種類の
命令を記憶するためにプロセッサに関連付けられた非一時的プロセッサ可読記憶媒体は、
限定はしないが、メモリ、ハードディスク、フラッシュドライブ、RAM、ROM、CD-ROM、DV
D、キャッシュなどのうちの1つまたは複数を含んでもよい。
【０１８３】
　プロセッサは、マルチプロセッサの速度および性能を向上させる場合がある1つまたは
複数のコアを含んでもよい。いくつかの実施形態では、プロセッサは、デュアルコアプロ
セッサ、クアッドコアプロセッサ、2つ以上の独立したコアを組み合わせる他のチップレ
ベルマルチプロセッサなどであってもよい。
【０１８４】
　本明細書で説明する方法およびシステムは、サーバ、クライアント、ファイアウォール
、ゲートウェイ、ハブ、ルータ、または他のコンピュータおよび/もしくはネットワーキ
ングハードウェア上でコンピュータソフトウェアを実行するマシンによって部分的または
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全体的に展開されてもよい。
【０１８５】
　ソフトウェアプログラムは、ファイルクライアント、印刷クライアント、ドメインクラ
イアント、インターネットクライアント、イントラネットクライアント、および二次クラ
イアント、ホストクライアント、分散クライアントなどの他の変形例を含んでもよい1つ
または複数のクライアントに関連付けられてもよい。クライアントは、メモリ、プロセッ
サ、コンピュータ可読媒体、記憶媒体、物理および仮想ポート、通信デバイス、ならびに
有線または無線媒体によって他のクライアント、サーバ、マシン、およびデバイスにアク
セスすることのできるインターフェースなどのうちの1つまたは複数を含んでもよい。本
明細書で説明するようなプログラムまたはコードは、クライアントによって実行されても
よい。さらに、この適用例において説明するような方法を実行するのに必要な他のデバイ
スは、クライアントに関連するインフラストラクチャの一部と見なされることがある。ク
ライアントは、サーバ、他のクライアント、プリンタ、データベースサーバ、プリントサ
ーバ、ファイルサーバ、通信サーバ、分散サーバなどを含む他のデバイスとのインターフ
ェースを構成してもよい。この結合および/または接続は、ネットワークを介したプログ
ラムのリモート実行を容易にすることがある。これらのデバイスのうちのいくつかまたは
すべてのネットワーク化は、1つまたは複数の位置におけるプログラムまたは方法の並列
実行を容易にすることがある。さらに、インターフェースによってクライアントに付加さ
れたデバイスのうちの任意のデバイスは、方法、プログラム、アプリケーション、コード
、および/または命令を記憶することができる少なくとも1つの記憶媒体を含んでもよい。
中央リポジトリは、様々なデバイス上で実行すべきプログラム命令を提供してもよい。こ
の実装形態では、リモートリポジトリは、プログラムコード、命令、およびプログラム用
の記憶媒体として働いてもよい。
【０１８６】
　ソフトウェアプログラムは、ファイルサーバ、プリントサーバ、ドメインサーバ、イン
ターネットサーバ、イントラネットサーバ、および二次サーバ、ホストサーバ、分散サー
バなどの他の変形例を含んでもよい1つまたは複数のサーバに関連付けられてもよい。サ
ーバは、メモリ、プロセッサ、コンピュータ可読媒体、記憶媒体、物理および仮想ポート
、通信デバイス、ならびに有線または無線媒体によって他のサーバ、クライアント、マシ
ン、およびデバイスにアクセスすることのできるインターフェースなどのうちの1つまた
は複数を含んでもよい。本明細書で説明するような方法、プログラム、またはコードはサ
ーバによって実行されてもよい。さらに、この適用例において説明するような方法を実行
するのに必要な他のデバイスは、サーバに関連するインフラストラクチャの一部と見なさ
れることがある。サーバは、クライアント、他のサーバ、プリンタ、データベースサーバ
、プリントサーバ、ファイルサーバ、通信サーバ、分散サーバ、ソーシャルネットワーク
などを含む他のデバイスとのインターフェースを構成してもよい。この結合および/また
は接続は、ネットワークを介したプログラムのリモート実行を容易にすることがある。こ
れらのデバイスのうちのいくつかまたはすべてのネットワーク化は、1つまたは複数の位
置におけるプログラムまたは方法の並列実行を容易にすることがある。インターフェース
によってサーバに付加されたデバイスのうちの任意のデバイスは、プログラム、コード、
および/または命令を記憶することができる少なくとも1つの記憶媒体を含んでもよい。中
央リポジトリは、様々なデバイス上で実行すべきプログラム命令を提供してもよい。この
実装形態では、リモートリポジトリは、プログラムコード、命令、およびプログラム用の
記憶媒体として働いてもよい。
【０１８７】
　本明細書で説明する方法およびシステムは、ネットワークインフラストラクチャによっ
て部分的または全体的に展開されてもよい。当技術分野で知られているように、ネットワ
ークインフラストラクチャは、コンピューティングデバイス、サーバ、ルータ、ハブ、フ
ァイアウォール、クライアント、パーソナルコンピュータ、通信デバイス、ルーティング
デバイス、ならびにその他の能動および受動デバイス、モジュール、ならびに/または構
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成要素などの要素を含んでもよい。ネットワークインフラストラクチャに関連するコンピ
ューティングおよび/または非コンピューティングデバイスは、他の構成要素は別として
、フラッシュメモリ、バッファ、スタック、RAM、ROMなどの記憶媒体を含んでもよい。本
明細書および他の部分で説明するプロセス、方法、プログラムコード、命令は、ネットワ
ークインフラストラクチャ要素のうちの1つまたは複数によって実行されてもよい。
【０１８８】
　本明細書および他の部分で説明する方法、プログラムコード、および命令は、モバイル
デバイス上でまたはモバイルデバイスを介して実施されてもよい。モバイルデバイスは、
ナビゲーションデバイス、携帯電話、モバイルフォン、モバイル携帯情報端末、ラップト
ップ、パームトップ、ネットブック、ページャ、電子ブックリーダ、音楽プレーヤなどを
含んでもよい。これらのデバイスは、他の構成要素は別として、フラッシュメモリ、バッ
ファ、RAM、ROM、および1つまたは複数のコンピューティングデバイスなどの記憶媒体を
含んでもよい。モバイルデバイスに関連付けられたコンピューティングデバイスは、記憶
されたプログラムコード、方法、および命令を実行するのを可能にされてもよい。代替と
して、モバイルデバイスは、他のデバイスと協働して命令を実行するように構成されても
よい。モバイルデバイスは、サーバとインターフェース接続されプログラムコードを実行
するように構成された基地局と通信してもよい。モバイルデバイスは、ピアツーピアネッ
トワーク、メッシュネットワーク、または他の通信ネットワーク上で通信してもよい。プ
ログラムコードは、サーバに関連付けられた記憶媒体上に記憶され、サーバ内に組み込ま
れたコンピューティングデバイスによって実行されてもよい。基地局は、コンピューティ
ングデバイスと記憶媒体とを含んでもよい。記憶デバイスは、基地局に関連付けられたコ
ンピューティングデバイスによって実行されるプログラムコードおよび命令を記憶しても
よい。
【０１８９】
　コンピュータソフトウェア、プログラムコード、および/または命令については、ある
時間間隔の間コンピューティングに使用されるデジタルデータを保持するコンピュータ構
成要素、デバイス、および記録媒体、ランダムアクセスメモリ(RAM)と呼ばれる半導体ス
トレージ、光学ディスク、ハードディスク、テープ、ドラム、カード、およびその他の種
類のような磁気ストレージ形式などの通常より永久的な記憶用のマスストレージ、プロセ
ッサレジスタ、キャッシュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、CD、DVDなどの光学
ストレージ、フラッシュメモリ、たとえば、USBスティックまたはキー、フロッピーディ
スク、磁気テープ、紙テープ、パンチカード、スタンドアロンRAMディスク、ジップドラ
イブ、リムーバブルマスストレージ、オフラインなどの取外し可能媒体、ダイナミックメ
モリ、スタチックメモリ、読取り/書込みストレージ、ミュータブルストレージ、読取り
専用、ランダムアクセス、シーケンシャルアクセス、ロケーションアドレス可能、ファイ
ルアドレス可能、コンテンツアドレス可能、ネットワーク接続ストレージ、ストレージエ
リアネットワーク、バーコード、磁気インクなどの他のコンピュータメモリを含んでもよ
い機械可読媒体上での記憶および/またはアクセスが行われてもよい。
【０１９０】
　本明細書で説明する方法、デバイス、装置、およびシステムは、物理的な品目および/
または有形の品目を1つの状態から別の状態に変換してもよい。本明細書で説明する方法
およびシステムはまた、物理的な品目および/または有形の品目を表すデータを1つの状態
から別の状態に変換してもよい。
【０１９１】
　本明細書に記載され、図全体におけるフローチャートおよびブロック図に含まれるモジ
ュール、エンジン、構成要素、および要素は、モジュール、エンジン、構成要素、および
要素間の論理的境界を暗示する。しかし、ソフトウェアまたはハードウェアエンジニアリ
ングの慣習に従って、モジュール、エンジン、構成要素、および要素ならびにそれらの機
能は、モノリシックソフトウェア構造、スタンドアロンソフトウェアモジュール、または
外部ルーチン、コード、サービス、もしくはこれらの任意の組合せを使用するモジュール
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として記憶されたプログラム命令を実行することができるコンピュータ実行可能媒体を介
して1つまたは複数のプロセッサ、コンピュータ、マシン上に実装されてもよく、すべて
のそのような実装形態は本開示の範囲内であってもよい。そのようなマシンの例には、限
定はしないが、携帯情報端末、ラップトップ、パーソナルコンピュータ、モバイルフォン
、他のハンドヘルドコンピューティングデバイス、医療機器、有線または無線通信デバイ
ス、トランスジューサ、チップ、計算器、衛星、タブレットPC、電子ブック、ガジェット
、電子デバイス、人工知能を有するデバイス、コンピューティングデバイス、ネットワー
ク化機器、サーバ、ルータ、プロセッサ組込みアイウェアなどが含まれてもよい。さらに
、フローチャートおよびブロック図におけるモジュール、エンジン、構成要素、および要
素または任意の他の論理構成要素は、プログラム命令を実行できる1つまたは複数のマシ
ン、コンピュータ、またはプロセッサ上に実装されてもよい。上記の説明および説明にお
いて参照された図面には、開示されたシステムのいくつかの機能態様が記載されているが
、明示的に指摘されるかまたは他の点で文脈から明らかでない限り、これらの機能態様を
実施するためのソフトウェアの特定の構成をこれらの説明から推定すべきではない。上記
で特定し説明した様々なステップが変形されてもよく、ステップの順序が本明細書で開示
された技法の特定の適用例に適合されてもよいことが諒解されよう。すべてのそのような
変形実施形態および修正実施形態は本開示の範囲内であることが意図される。様々なステ
ップの順序の説明は、特定の適用例によって必要とされるか、または明示的に指摘される
かもしくは他の点で文脈から明らかでない限り、それらのステップを実行する特定の順序
を必要とすると理解すべきではない。
【０１９２】
　上述の方法および/またはプロセスならびにそれらのステップは、特定の適用例に適し
たハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアの任意の組合せにお
いて実現されてもよい。ハードウェアは、汎用コンピュータならびに/あるいは専用コン
ピューティングデバイスまたは特定のコンピューティングデバイスまたは特定のコンピュ
ーティングデバイスの特定の態様もしくは構成要素を含んでもよい。プロセスは、1つも
しくは複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、組込みマイクロコントローラ
、プログラム可能デジタル信号プロセッサ、または他のプログラム可能デバイスにおいて
、内部および/または外部メモリと協働して実現されてもよい。プロセスは、追加または
代替として、特定用途向け集積回路、プログラム可能ゲートアレイ、プログラム可能アレ
イロジック、または電子信号を処理するように構成されてもよい任意の他のデバイスもし
くはデバイスの組合せにおいて具現化されてもよい。プロセスのうちの1つまたは複数が
、機械可読媒体上で実行することができるコンピュータ実行可能コードとして実現されて
もよいことがさらに諒解されよう。
【０１９３】
　コンピュータ実行可能コードは、上記のデバイスのうちの1つ上に記憶され、かつその
デバイス上で動作するようにコンパイルまたは解釈されてもよいオブジェクト指向プログ
ラミング言語、ならびにプロセッサ、プロセッサアーキテクチャの異種組合せ、または異
なるハードウェアおよびソフトウェアの組合せ、またはプログラム命令を実行することが
できる任意の他のマシンを使用して作成されてもよい。
【０１９４】
　したがって、上述の各方法およびそれらの組合せは、1つまたは複数のコンピューティ
ングデバイス上で実行されたときに方法のステップを実行するコンピュータ実行可能コー
ドにおいて具現化されてもよい。別の態様では、方法は、そのステップを実行するシステ
ムにおいて具現化されてもよく、いくつかの方法で各デバイスに分散されてもよく、また
は機能のすべてが専用スタンドアロンデバイスまたは他のハードウェアに組み込まれても
よい。別の態様では、上述のプロセスに関連するステップを実行するための手段は、上述
のハードウェアおよび/またはソフトウェアのうちのいずれを含んでもよい。すべてのそ
のような変形および組合せは、本開示の範囲内であることが意図される。
【０１９５】
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　本発明のいくつかの実施形態について説明したが、これらの実施形態は一例としてのみ
提示されており、本発明の範囲を制限するものではない。すなわち、本明細書で説明する
新規の実施形態は、様々な他の形態で具現化されてもよく、さらに、本明細書で説明した
実施形態の形の様々な省略、置換、および変更は、本発明の趣旨から逸脱せずに施されて
もよい。添付の特許請求の範囲およびその均等物は、本発明の範囲および趣旨の範囲内で
あるような形態または修正を対象とするものである。
【符号の説明】
【０１９６】
　　1、2、3、4　クラスベースアプリケーションモジュール/インスタンス
　　302、402　グリッドコントロール
　　401　新しいクラスモジュール名
　　403　子APM
　　APM　アプリケーションモジュール
　　CBAPM　クラスベースアプリケーションモジュール
　　CCM　子クラスモジュール
　　CM　クラスモジュール
　　CMB　新しい複製クラスモジュール
　　GAPM　グループアプリケーションモジュール
　　GCM　グループクラスモジュール
　　33000　物理フィールド制御システム
　　50000　プラントエンジニアリングシステム
　　51000　グループモジュールエンジニアリングシステム、モジュールエンジニアリン
グエディタ
　　51100　ライブラリナビゲータ
　　51110　クラスモジュールライブラリ
　　51120　グループクラスモジュールライブラリ
　　51200　アプリケーション構造ナビゲータ
　　51300　システム構造
　　51400　グループモジュールインスタンス化エンジン
　　51500　グループモジュール更新エンジン
　　51600　モジュールバインディングエンジン
　　52000　制御ネットワーク
　　53000　物理フィールドコントローラ
　　54000　フィールドネットワーク
　　55000　フィールドデバイス
　　56000　制御システム
　　56100　システムエンジニアリングデータベース
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